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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成形されるべきポリマーの表面の少なくとも一部にナノスケールサイズの表面テキスチ
ャを形成するポリマーの成形方法であって、
　ガラス転移温度よりも高い温度状態にあるポリマー押出し物を、押出しヘッドから、被
着される前記ポリマー中の剪断応力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑え
る仕方で、連続的に前進する第１のモールドの下側成形面に連続的に被着させるステップ
を含み、
　該ステップでは、
　前記下側成形面の温度を前記ガラス転移温度よりも高い温度で維持するために下側成形
面を加熱し、加熱された下側成形面は、前記ポリマー押出し物を前記ガラス転移温度以上
で維持し、前記ポリマー押出し物は、前記加熱された下側成形面に被着されるときに、実
質的に液体状態であり、又はこれに近い状態にあり、
　配置されるポリマーが下側成形面を横切って動かないように、押出しの線速度と、連続
的に前進する下側成形面の速度を一致させ、前記ポリマーが重力により動くが、任意他の
力によっては動かないようにし、
　前記ポリマーを前記ガラス転移温度よりも高い温度で維持しながら、連続的に前進する
第２のモールドの上側成形面を前記ポリマーの少なくとも上面に当てるステップを備え、
前記下側成形面の温度は、圧力成形ゾーンに入るポリマーを前記ガラス転移温度よりも高
く維持するのに十分に高く維持されており、
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　前記ポリマーが前記上側及び前記下側成形面の間の圧力成形ゾーンにある状態で、前記
ガラス転移温度よりも高い温度から前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移できるよう
にするステップとを有し、
　能動的に制御される熱除去が、前記ポリマーが前記圧力成形ゾーン内に位置していると
き、前記上側成形面及び前記下側成形面のうちの少なくとも一方を介して前記ポリマーか
ら起こり、それにより、前記ポリマーを、前記ガラス転移温度よりも高い温度から前記圧
力成形ゾーン内における前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移させ、
　少なくとも前記上側成形面及び下側成形面の少なくとも一方のために複数のヒートシン
クを設け、前記ヒートシンクは、前記圧力成形ゾーンに沿って互いに間隔を置いて配置さ
れており、前記圧力成形ゾーン内の、より前進した位置にあるヒートシンクは、前記圧力
成形ゾーン内の、より前進していない位置にある隣接するヒートシンクよりも低い温度で
制御され、これにより、前記ポリマーが前記圧力成形ゾーンを前進するに従って前記ポリ
マーの温度を次第に低下させ、
　前記能動的熱除去の後、前記ポリマーは、前記成形面から取り出される、方法。
【請求項２】
　２種類のポリマーを成形する方法であって、少なくとも一方のポリマーの表面の少なく
とも一部にナノスケールサイズの表面テキスチャを形成する方法において、
　第１のポリマー及び第２のポリマーの各々を各ポリマーのそれぞれのガラス転移温度よ
りも高い温度まで加熱するステップを有し、
　前記ポリマーのうちの第１のポリマーを、連続的に前進する第１のモールドの下側成形
面に連続的に押出すステップを有し、押出された前記第１のポリマーは、そのガラス転移
温度よりも高い温度のままであり、
　前記ポリマーのうちの第２のポリマーを前記第１のポリマーの上面に連続的に押出すス
テップを有し、押出された前記第２のポリマーは、そのガラス転移温度よりも高い温度の
ままであり、
　前記第１のポリマー及び第２のポリマーは、
　前記下側成形面の温度を前記ガラス転移温度よりも高い温度で維持するために下側成形
面を加熱し、加熱された下側成形面は、前記ポリマー押出し物を前記ガラス転移温度以上
で維持し、前記ポリマー押出し物は、前記加熱された下側成形面に被着されるときに、実
質的に液体状態であり、又はこれに近い状態にあり、
　配置されるポリマーが下側成形面を横切って動かないように、押出しの線速度と、連続
的に前進する下側成形面の速度を一致させ、前記ポリマーが重力により動くが、任意他の
力によっては動かないようにすることによって、
　ポリマー中の剪断応力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で、
押出しヘッドから連続的に押出され、
　各々の前記ポリマーをガラス転移温度よりも高い温度で維持しながら、連続的に前進す
る第２のモールドの上側成形面を少なくとも前記第２のポリマーの前記上面に当てるステ
ップを有し、前記下側成形面の温度は、圧力成形ゾーンに入るポリマーを前記ガラス転移
温度よりも高く維持するのに十分に高く維持されており、
　前記ポリマーが前記上側及び下側成形面の間の圧力成形ゾーンにある状態で、それぞれ
の前記ガラス転移温度よりも高い温度から、前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移で
きるようにするステップを有し、
　能動的に制御される熱除去が、前記ポリマーが前記圧力成形ゾーン内に位置していると
き、前記上側成形面及び前記下側成形面のうちの少なくとも一方を介して前記ポリマーか
ら起こり、それにより、前記ポリマーを、前記ガラス転移温度よりも高い温度から前記圧
力成形ゾーン内における前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移させ、
　少なくとも前記上側成形面及び下側成形面の少なくとも一方のために複数のヒートシン
クを設け、前記ヒートシンクは、前記圧力成形ゾーンに沿って互いに間隔を置いて配置さ
れており、前記圧力成形ゾーン内の、より前進した位置にあるヒートシンクは、前記圧力
成形ゾーン内の、より前進していない位置にある隣接するヒートシンクよりも低い温度で
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制御され、これにより、前記ポリマーが前記圧力成形ゾーンを前進するに従って前記ポリ
マーの温度を次第に低下させ、
　前記能動的熱除去の後、互いに結合されたポリマーは、前記上側及び前記下側成形面か
ら取り出される、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、
　多種類のポリマーの各々を各ポリマーのそれぞれのガラス転移温度よりも高い温度まで
加熱するステップを有し、
　一つ又はそれ以上の更なるポリマーを、前記第２のポリマー又は更なるポリマーの露出
面に連続的に配置するステップを有し、前記更なるポリマーは、それぞれのガラス転移温
度よりも高い温度のままであり、
　前記ポリマーを前記上側成形面及び下側成形面の間に維持したまま、それぞれのガラス
転移温度よりも高い温度から、それぞれのガラス転移温度よりも低い温度に転移できるよ
うにするステップを有し、
　その後、前記ポリマーは、互いに結合された状態で、前記上側及び前記下側成形面から
取り出される、方法。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか一に記載の方法であって、
　ポリマーの成形の大部分は、ポリマーが表面上に当初流されたときの成形面の表面凹凸
又はパターンを取ることによって起こり、重力は、次の機械的力が上側成形面の圧縮ステ
ップによって加えられる前にポリマーをモールド中に動かすのを助ける、方法。
【請求項５】
　成形されるべきポリマーは全体として、少なくとも成形圧力を前記上側成形面と前記下
側成形面との間でポリマーに当初加えている間、それぞれのガラス転移温度よりも高い温
度のままである請求項１～４のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項６】
　前記成形面は、各々、熱伝導性であるモールド部分の一部である請求項１～５のうちい
ずれか一に記載の方法。
【請求項７】
　前記下側成形面は、成形されるべき前記ポリマーを少なくとも前記上側成形面を当てる
前記ステップの実施に先立って、それぞれのガラス転移温度よりも高い温度に維持するよ
う温度制御可能である、請求項１～６のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項８】
　前記上側及び前記下側成形面は、成形された前記ポリマーを前記成形面から取り出す前
に、成形された前記ポリマーがそれぞれのガラス転移温度よりも低い温度に制御可能に低
下できるようにするよう温度制御可能である、請求項１～７のうちいずれか一に記載の方
法。
【請求項９】
　前記第１のモールドは、第１又は下側定盤に取り付けられる、請求項１～８のうちいず
れか一に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のモールドは、第２の又は上側定盤に取り付けられる、請求項１～９のうちい
ずれか一に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ポリマーは、そのポリマーガラス転移温度よりも高い温度状態になると、下側成形
面及び上側成形面の形状を取る、請求項１～１０のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１２】
　メルトポンプが前記ポリマーの流量を制御する、請求項１～１１のうちいずれか一に記
載の方法。
【請求項１３】
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　前記ポリマーは、前記ガラス転移温度よりも高い温度状態にあるとき、液相の状態にあ
る、請求項１～１２のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１４】
　前記成形面は、成形されるべき前記ポリマーが当初、前記上側成形面と前記下側成形面
との間に配置されているとき、成形されるべき前記ポリマーのガラス転移温度よりも高い
温度状態にある、請求項１～１３のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１５】
　前記成形面は、上側成形面をポリマー又は最も上側に位置するポリマーの少なくとも前
記上面に当てるステップの実施中、前記ポリマーのガラス転移温度よりも高い温度状態に
維持される、請求項１～１４のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１６】
　前記上側成形面及び前記下側成形面は、最大約５００ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力を前
記ポリマーに加える、請求項１～１５のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１７】
　前記上側成形面及び前記下側成形面は、最大約２６０ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力を前
記ポリマーに加える、請求項１～１６のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１８】
　前記上側成形面及び前記下側成形面は、最大約６０ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力を前記
ポリマーに加える、請求項１～１７のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１９】
　前記上側成形面及び前記下側成形面は、約１～２００ｋｇ／ｃｍ2、１～１５０ｋｇ／
ｃｍ2、１～１００ｋｇ／ｃｍ2、１～９０ｋｇ／ｃｍ2、１～８０ｋｇ／ｃｍ2、１～７０
ｋｇ／ｃｍ2、１～６０ｋｇ／ｃｍ2、１～５０ｋｇ／ｃｍ2、１～４０ｋｇ／ｃｍ2、１～
３０ｋｇ／ｃｍ2、１～２０ｋｇ／ｃｍ2、１～１０ｋｇ／ｃｍ2、１～９ｋｇ／ｃｍ2、１
～８ｋｇ／ｃｍ2、１～７ｋｇ／ｃｍ2、１～６ｋｇ／ｃｍ2、１～５ｋｇ／ｃｍ2、１～４
ｋｇ／ｃｍ2、１～３ｋｇ／ｃｍ2、１～２ｋｇ／ｃｍ2、１～１．５ｋｇ／ｃｍ2、１～１
．２ｋｇ／ｃｍ2の成形圧力を前記ポリマーに加える、請求項１～１８のうちいずれか一
に記載の方法。
【請求項２０】
　前記上側成形面及び前記下側成形面は、約１ｋｇ／ｃｍ2以下の成形圧力を前記ポリマ
ーに加える、請求項１～１９のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項２１】
　前記上側成形面及び前記下側成形面は、約０．９ｋｇ／ｃｍ2、０．８ｋｇ／ｃｍ2、０
．７ｋｇ／ｃｍ2、０．６ｋｇ／ｃｍ2、０．５ｋｇ／ｃｍ2、０．４ｋｇ／ｃｍ2、０．３
ｋｇ／ｃｍ2、０．２ｋｇ／ｃｍ2、０．１ｋｇ／ｃｍ2の成形圧力を前記ポリマーに加え
る、請求項１～２０のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ポリマーは、熱硬化性又は熱可塑性ポリマーである、請求項１～２１のうちいずれ
か一に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ポリマーは、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、汎用ポリスチレ
ン（ＧＰＰＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、熱可塑性（ポリ）ウレタン（
ＴＰＵ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエステルメタクリレート（ＰＥ
Ｍ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニトリル
ブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリエステル（ＰＥＳ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリ塩
化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリビニリデンクロリド（ＰＶＤＣ）、ポ
リエチレン（ＰＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリエーテルエーテル
ケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリ乳酸
（ＰＬＡ）、耐衝撃性ポリスチレン、ナイロン、アクリル樹脂、非晶質ポリマー、低密度
ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、超低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、熱可塑性エチレン（
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ＴＰＥ）、ゴム、フェノール樹脂のうちから選択された１つである、請求項１～２２のう
ちいずれか一に記載の方法。
【請求項２４】
　前記上側成形面は、２つの前記成形面相互間での前記ポリマーの運動により圧力を前記
ポリマーに加えるよう前記ポリマーに当てられる、請求項１～２３のうちいずれか一に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記下側成形面は、コンベヤによって支持される、請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記上側成形面は、コンベヤによって支持される、請求項２４又は２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記下側成形面は、第１のコンベヤにより支持されると共に動かされ、前記上側成形面
は、前記第１のコンベヤに隣接して配置された第２のコンベヤによって支持されると共に
動かされ、それにより、前記第２の成形面を前記第１の成形面に隣接して位置決めすると
共に前記第１及び前記第２の成形面を前記ポリマーが前記第１の成形面と前記第２の成形
面との間で圧力を受ける圧力ゾーン中に動かす、請求項２４記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１の成形面及び前記第２の成形面のうちの少なくとも一方の温度は、前記圧力ゾ
ーン内で能動的に制御される、請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記下側成形面の温度は、前記圧力ゾーンに入る前に、能動的に制御される、請求項２
７又は２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記能動的に制御される熱除去は、前記ポリマーが前記圧力ゾーン内に位置していると
き、前記上側成形面及び前記下側成形面のうちの少なくとも一方を介して前記ポリマーか
ら起こり、それにより、前記ポリマーを少なくとも前記第１及び前記第２の成形面のうち
の少なくとも一方の温度の制御により、そのガラス転移温度よりも高い温度から前記圧力
ゾーン内におけるそのガラス転移温度よりも低い温度に転移させる、請求項２７又は２８
記載の方法。
【請求項３１】
　前記方法は、ポリマーを連続的に成形するための方法である、請求項１～３０のうちい
ずれか一に記載の方法。
【請求項３２】
　０．１～１，０００ｎｍの少なくとも１つの寸法を有するナノスケールサイズの表面テ
キスチャが前記ポリマーフィルム又はシートの表面のうちの少なくとも一方に設けられて
いる、請求項１～３１のうちいずれか一に記載の方法で形成されたポリマーフィルム又は
シート。
【請求項３３】
　ポリマーの表面の少なくとも一部にナノスケールサイズの表面テキスチャを形成するた
めにポリマーを連続的に形成する装置であって、
　ポリマー押出し物を連続的に押し出す押出し機を有し、前記押出し機は、押出しヘッド
を含み、
　前記押出し物をそのガラス転移温度以上の温度状態で受け入れる成形ゾーンを有し、前
記成形ゾーンは、１つ又は複数の第１のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する第１
の成形面及び１つ又は複数の第２のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する第２の成
形面により構成され、
　前記第１の成形面が前記成形ゾーンに入る前に、前記第１の成形面の温度が、前記成形
ゾーンに入る前記ポリマーを前記ガラス転移温度よりも高い温度に維持するのに十分に高
くなるように、前記第１の成形面をポリマーの前記ガラス転移温度よりも高い温度まで加
熱するヒータを備え、
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　前記第１の成形面は、前記ポリマーが前記成形ゾーンに入る前に、前記ポリマー中の剪
断応力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で被着された前記押出
し物を受け入れるように構成され、かつ前記ポリマー押出し物を前記成形ゾーンに搬送す
るように構成され、前記ポリマーは、前記第１の成形面に連続的に被着されるときに、実
質的に液体状態であり、又はこれに近い状態にあり、配置されるポリマーが下側成形面を
横切って動かないように、押出しの線速度と、連続的に前進する下側成形面の速度を一致
させ、前記ポリマーが重力により動くが、任意他の力によっては動かないようにし、
　前記成形ゾーンに沿って互いに間隔を置いて配置され、前記ポリマーが成形ゾーン内に
あるときに、前記第１及び第２の成形面の少なくとも一方を通して前記ポリマーから能動
的に熱を除去するための複数のヒートシンクを備え、前記成形ゾーン内で前記ポリマーを
前記ガラス転移温度よりも高い温度から、前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移させ
、
　前記圧力成形ゾーン内の、より前進した位置にあるヒートシンクが、前記圧力成形ゾー
ン内の、より前進していない位置にある隣接するヒートシンクよりも低い温度になるよう
に制御し、これにより、前記ポリマーが前記圧力成形ゾーンを前進するに従って前記ポリ
マーの温度を次第に低下させる制御装置を備え、
　前記成形ゾーンは、前記ポリマー押出し物に
　ａ．圧力を及ぼし、そして
　ｂ．モールドによる成形を施し、ナノスケールサイズの表面テキスチャを前記ポリマー
の表面の少なくとも一部に与え、そして
　ｃ．前記第１及び第２の成形面を通して前記ヒートシンクにより熱除去を施して前記ポ
リマーを前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移させるよう構成されている、装置。
【請求項３４】
　各前記ヒートシンクの温度を制御するために各前記ヒートシンクのために温度制御装置
が設けられている、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記第１及び前記第２の成形面のうちの少なくとも一方は、熱をヒータによって前記成
形ゾーンの少なくとも開始時に前記ポリマーに伝達することができる、請求項３３又は３
４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記成形ゾーンに入る前に前記第２の成形面を加熱するための少なくとも１つのヒータ
が設けられている、請求項３３又は３４に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ヒータは、前記ポリマーを少なくとも前記成形ゾーンの開始時にそのガラス転移温
度よりも高い温度に維持しやすくすることができる、請求項３３～３６のうちいずれか一
に記載の装置。
【請求項３８】
　前記ヒータは、少なくとも前記ポリマーが前記成形ゾーンに入る直前に、前記ポリマー
を前記そのガラス転移温度よりも高い温度に維持しやすくすることができる、請求項３３
～３６のうちいずれか一に記載の装置。
【請求項３９】
　前記第１及び前記第２の成形面のうちの少なくとも一方は、ナノサイズの表面テキスチ
ャを有し、前記ナノサイズの表面テキスチャは、前記ポリマーに実質的に対応したナノサ
イズの表面テキスチャを形成することができる、請求項３３～３８のうちいずれか一に記
載の装置。
【請求項４０】
　複数個の別々の且つ／或いは連続して前進する第１及び第２の成形面が前記成形ゾーン
を通って前進することができるよう設けられ、各成形面は、同期速度で対をなした関係で
前記成形ゾーン中を前進する、請求項３３～３９のうちいずれか一に記載の装置。
【請求項４１】
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　前記成形ゾーンを繰り返し通過する有限の数の又は別々の数の第１及び第２の成形面が
設けられている、請求項３３～４０のうちいずれか一に記載の装置。
【請求項４２】
　前記成形ゾーンを１回だけ通過する有限の数の又は別々の数の第１及び第２の成形面が
設けられている、請求項３３～４１のうちいずれか一に記載の装置。
【請求項４３】
　前記第１及び前記第２の成形面のうちの少なくとも一方は、各々、連続した形状のもの
である、請求項３３～４２のうちいずれか一に記載の装置。
【請求項４４】
　ポリマーの表面の少なくとも一部にナノスケールサイズの表面テキスチャを形成する、
ポリマーを連続的に形成する装置であって、
　同時押出し形態の少なくとも２種類のポリマーの押出し物を形成する少なくとも１つの
押出し機を有し、
　前記押出し物を受け入れる成形ゾーンであって、前記ポリマーがそれぞれのガラス転移
温度よりも高い温度状態にある状態で受け入れる成形ゾーンを有し、前記成形ゾーンは、
１つ又は複数の第１のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する第１の成形面及び１つ
又は複数の第２のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する第２の成形面により構成さ
れ、
　前記第１の成形面が前記成形ゾーンに入る前に、前記第１の成形面の温度が、前記成形
ゾーンに入る前記ポリマーを前記ガラス転移温度よりも高い温度に維持するのに十分に高
くなるように、前記第１の成形面をポリマーの前記ガラス転移温度よりも高い温度まで加
熱するヒータを備え、
　前記第１の成形面は、前記ポリマーが前記成形ゾーンに入る前に、前記ポリマー中の剪
断応力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で被着された前記押出
し物を受け入れるように構成され、かつ前記ポリマー押出し物を前記成形ゾーンに搬送す
るように構成され、前記ポリマーは、前記第１の成形面に連続的に被着されるときに、実
質的に液体状態であり、又はこれに近い状態にあり、配置されるポリマーが下側成形面を
横切って動かないように、押出しの線速度と、連続的に前進する下側成形面の速度を一致
させ、前記ポリマーが重力により動くが、任意他の力によっては動かないようにし、
　前記成形ゾーンに沿って互いに間隔を置いて配置され、前記ポリマーが成形ゾーン内に
あるときに、前記第１及び第２の成形面の少なくとも一方を通して前記ポリマーから能動
的に熱を除去するための複数のヒートシンクを備え、前記成形ゾーン内で前記ポリマーを
前記ガラス転移温度よりも高い温度から、前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移させ
、
　前記圧力成形ゾーン内の、より前進した位置にあるヒートシンクが、前記圧力成形ゾー
ン内の、より前進していない位置にある隣接するヒートシンクよりも低い温度になるよう
に制御し、これにより、前記ポリマーが前記圧力成形ゾーンを前進するに従って前記ポリ
マーの温度を次第に低下させる制御装置を備え、
前記成形ゾーンは、前記ポリマー押出し物に
　ａ．圧力を及ぼし、そして
　ｂ．モールドによる成形を施し、ナノスケールサイズの表面テキスチャを前記ポリマー
の表面の少なくとも一部に与え、そして
　ｃ．前記第１及び第２の成形面を通して前記ヒートシンクにより熱除去を施して前記ポ
リマーを前記ガラス転移温度よりも低い温度に転移させるよう構成されている、装置。
【請求項４５】
　前記押出し機は、前記ポリマーの各種類について設けられている、請求項４４記載の装
置。
【請求項４６】
　請求項３３～４５のうちいずれか一に記載の装置により成形されたナノサイズの表面テ
キスチャを備えたポリマー。
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【請求項４７】
　請求項３３又は４５記載の装置により成形されたナノサイズの表面テキスチャを備えた
材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形方法に関し、特に、超精密構造体又はナノ構造体又はこれら両方を成形
し又は作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　分子スケールと顕微鏡的スケールとの間のスケールを持つナノ構造体又は微細構造体、
例えば任意の加工又は製造された構造体の大量生産的成形又は作製は、既存の成形技術に
とって課題を提供する。
【０００３】
　例えば、成形プロセス、例えば射出成形法により製造されるアイテム（成形品）又はア
イテムの前駆物質は、応力のかかった材料状態で成形されている場合がある。成形プロセ
スそれ自体は、このようにして成形された材料又はアイテムに例えば変形応力、剪断応力
、流動応力及び温度応力のような応力を与える。一般的に言って、既存の成形技術では、
生産速度が高ければ高いほど、成形された製品に加えられる傾向のある応力がそれだけ一
層大きくなる。伝統的に、これら応力は、製品を大量生産しようとする場合に大幅に増大
する。
【０００４】
　製品を成形した場合のもう１つの欠点としては、成形ステップ後に材料中に残存してい
る熱によってインプリントされ又は成形されたアイテム又は製品が後で変形するというこ
とが挙げられる。熱伝達量は、アイテム又は製品が冷却するのに要する時間の長さ及びパ
ターンを保持するためのインプリント形状に悪影響を及ぼす場合がある。
【０００５】
　アイテム又はアイテムを成形するための前駆物質を、成形時の応力又は成形プロセス中
におけるアイテムの端から端までの温度のばらつきに起因してアイテム中にロックアップ
状態になる場合のある応力と関連した問題をなくし又は軽減する仕方で製造し又は作製す
ることができれば有益である。アイテムをニヤネットシェイプに成形する際の全体的縮み
を減少させ又は最小限に抑えることによっても、高い製造上の効率が得られる。
【０００６】
　したがって、製品を大量生産することができれば非常に有利である。大量生産は、単位
当たりの有効コスト又は製造される単位面積当たりのコストを減少させるのを助ける。大
量生産を可能にすることにより、従来可能ではなかったこのような高い効率の実現が可能
である。多くの量又は広い面積を大量生産することができるということにより、伝統的な
成形方法では従来可能ではなかった製品の商業化が可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、アイテムを成形する改良方法を提供し又はこのような改
良方法若しくはこのような改良方法により形成された前駆物質により成形されたアイテム
を提供して上述の問題を解決するナノスケール又は近ナノスケールで成形特徴部をもたら
すことにあり或いは少なくとも業界又は公衆に有用な選択肢を提供することにある。
【０００８】
　特許明細書又は他の外国特許文献若しくは他の情報源を参照する本明細書において、こ
れは、一般に、本発明の特徴を説明するための技術背景を提供する目的のために与えられ
ている。別段の指定がなければ、このような外国特許文献の参照は、このような特許文献
又はこのような情報源が任意の管轄権の範囲内において、先行技術であり又は当該技術分
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野における通常の知識の一部をなすという承認として解されるべきではない。
【０００９】
　本発明の別の観点及び別の利点は、例示的に与えられるに過ぎない以下の説明から明ら
かになろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の態様では、本発明の要旨は、広義には、ポリマーの成形方法であって、成形され
るべきポリマーをそのガラス転移温度よりも高い温度まで加熱するステップと、ポリマー
を第１のモールドの成形面（以下、「下側成形面」という）に連続的に（好ましくは、流
動又は塗被により）被着させる（好ましくは、このように被着されるポリマー中の剪断応
力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で）ステップとを有し、ポ
リマーは、ガラス転移温度よりも高い温度のままであり、この方法は、ポリマーがガラス
転移温度よりも高い温度を保っている間、第２のモールドの成形面（以下、「上側成形面
」という）をポリマーの少なくとも露出面（以下、「上面」という）に当てるステップと
、ポリマーが上側及び下側成形面内に又はこれら相互間に保持された状態でガラス転移温
度よりも低い温度に転移できるようにするステップとを更に有し、その後、ポリマーは、
成形面から取り出されることを特徴とする方法にある。
【００１１】
　第２の態様では、本発明の要旨は、広義には、ポリマーの成形方法であって、ガラス転
移温度よりも高い温度状態にあるポリマーを第１のモールドの成形面（以下、「下側成形
面」という）に連続的に（好ましくは、流動又は塗被により）被着させる（好ましくは、
このように被着されるポリマー中の剪断応力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小
限に抑える仕方で）ステップと、ポリマーがガラス転移温度よりも高い温度を保っている
間、第２のモールドの成形面（以下、「上側成形面」という）をポリマーの少なくとも露
出面（以下、「上面」という）に当てるステップと、ポリマーが上側及び下側成形面内に
又はこれら相互間に保持された状態でガラス転移温度よりも低い温度に転移できるように
するステップとを有し、その後、ポリマーは、成形面から取り出されることを特徴とする
方法にある。
【００１２】
　第３の態様では、本発明の要旨は、広義には、２種類のポリマーを成形する方法であっ
て、第１のポリマー及び第２のポリマーの各々を各ポリマーのそれぞれのガラス転移温度
よりも高い温度まで加熱するステップと、ポリマーのうちの第１のポリマーを第１のモー
ルドの成形面（以下、「下側成形面」という）に連続的に（好ましくは、流動又は塗被に
より）被着させる（好ましくはこのように被着されるポリマー中の剪断応力又は他の応力
を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で）ステップとを有し、第１のポリマーは
、そのガラス転移温度よりも高い温度のままであり、この方法は、ポリマーのうちの第２
のポリマーを第１のポリマーの露出面（以下、「上面」という）に連続的に被着させる（
好ましくは、このように被着されるポリマー中の剪断応力、又は他の応力を減少させ、ゼ
ロにし又は最小限に抑える仕方で）ステップを更に有し、第２のポリマーは、そのガラス
転移温度よりも高い温度のままであり、この方法は、ポリマーがそれぞれのガラス転移温
度よりも高い温度を保っている間、第２のモールドの成形面（以下、「上側成形面」とい
う）を少なくとも第２のポリマーの上面に当てるステップと、ポリマーが成形面内に又は
これら相互間に保持された状態でそれぞれのガラス転移温度よりも低い温度に転移できる
ようにするステップとを更に有し、その後、ポリマーは、互いに結合された状態で、上側
及び下側成形面から取り出されることを特徴とする方法にある。
【００１３】
　第４の態様は、本発明の要旨は、広義には、多種類のポリマーを成形する方法であって
、多種類のポリマーの各々を各ポリマーのそれぞれのガラス転移温度よりも高い温度まで
加熱するステップと、ポリマーのうちの第１のポリマーを第１のモールドの成形面（以下
、「下側成形面」という）に連続的に（好ましくは、流動又は塗被により）被着させる（
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好ましくはこのように被着されるポリマー中の剪断応力又は他の応力を減少させ、ゼロに
し又は最小限に抑える仕方で）ステップとを有し、第１のポリマーは、そのガラス転移温
度よりも高い温度のままであり、この方法は、ポリマーのうちの第２のポリマーを第１の
ポリマーの露出面（以下、「上面」という）に連続的に被着させる（好ましくは、このよ
うに被着されるポリマー中の剪断応力、又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に
抑える仕方で）ステップを更に有し、第２のポリマーは、そのガラス転移温度よりも高い
温度のままであり、この方法は、１種類又は２種類以上の別のポリマーを別のポリマーの
それぞれの露出面（以下、「上面」という）に連続的に被着させる（好ましくは、このよ
うに被着されるポリマー中の剪断応力、又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に
抑える仕方で）ステップを更に有し、別のポリマーの各々は、それぞれのガラス転移温度
よりも高い温度のままであり、この方法は、ポリマーの各々がそれぞれのガラス転移温度
よりも高い温度を保っている間、第２のモールドの成形面（以下、「上側成形面」という
）を少なくとも最も上側に位置するポリマーの上面に当てるステップと、ポリマーが成形
面内に又はこれら相互間に保持された状態でそれぞれのガラス転移温度よりも低い温度に
転移できるようにするステップとを更に有し、その後、ポリマーは、互いに結合された状
態で、上側及び下側成形面から取り出されることを特徴とする方法にある。
【００１４】
　第５の態様は、本発明の要旨は、広義には、ポリマーを連続的に成形する方法であって
、ポリマーをそのガラス転移温度よりも高い温度の状態で成形ゾーン内に連続的に前進さ
せると共にこれを通って前進させるステップを有し、
ポリマーは、
　ａ．圧力を受け、そして
　ｂ．モールドによる成形を受け、モールド成形は、ナノスケールサイズの表面テキスチ
ャ（好ましくは、ナノスケールサイズのテキスチャは、０．１～１，０００ｎｍの少なく
とも１つの寸法を有する）をポリマーの表面の少なくとも一部に与え、そして
　ｃ．能動的熱除去を受け、能動的熱除去は、ポリマーをガラス転移温度よりも低い温度
に転移させ、
　成形ゾーンを出た後に、ポリマーは、成形面から取り出されることを特徴とする方法に
ある。
【００１５】
　好ましくは、成形ゾーンは、１つ又は複数の第１のモールドの１つ又は複数の成形面（
以下、「下側成形面」という）及び１つ又は複数の第２のモールドの１つ又は複数の成形
面（以下、「上側成形面」という）を連続的に前進させることにより構成される。
【００１６】
　好ましくは、成形されるべきポリマーは全体として、少なくとも成形圧力を上側成形面
と下側成形面との間でポリマーに当初加えている間、それぞれのガラス転移温度よりも高
い温度のままである。
　好ましくは、成形面は、各々、熱伝導性であるモールド部分の一部である。
【００１７】
　好ましくは、下側成形面及び好ましくは上側成形面は、成形されるべきポリマーを少な
くとも上側成形面を当てるステップの実施に先立って、それぞれのガラス転移温度よりも
高い温度に維持するよう温度制御可能である。
【００１８】
　好ましくは、上側及び下側成形面は、成形されたポリマーを成形面から取り出す前に、
成形されたポリマーがそれぞれのガラス転移温度よりも低い温度に制御可能に低下できる
ようにするよう温度制御可能である。
【００１９】
　好ましくは第１のモールドは、第１又は下側定盤に取り付けられる。
　好ましくは、第２のモールドは、第２の又は上側定盤に取り付けられる。
【００２０】
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　好ましくは、成形面のうちの少なくとも１つは、１つ又は２つ以上のナノ又は近ナノ又
はミクロン又は近ミクロンサイズの表面凹凸又はプロフィールを備えている。
　好ましくは、成形面のうちの少なくとも１つは、ナノ又は近ナノ又はミクロン又は近ミ
クロンサイズの表面パターンを備えている。
【００２１】
　好ましくは、上側成形面を当てるステップは、上側成形面を上側のポリマーの少なくと
も最も上側の表面に接触させるステップを含む。
【００２２】
　好ましくは、ポリマーは、そのポリマーガラス転移温度よりも高い温度状態になると、
下側成形面及び上側成形面の形状を取る。
　好ましくは、ポリマーは、ガラス転移温度よりも高い温度に加熱されると共に押出しに
より押出しヘッドに送られて直接下側成形面上に流れる。
【００２３】
　好ましくは、メルトポンプがポリマーの流量を制御する。
　好ましくは、ポリマーは、ガラス転移温度よりも高い温度状態にあるとき、液相の状態
にある。
【００２４】
　好ましくは、成形面は、成形されるべきポリマーが当初、上側成形面と下側成形面との
間に配置されているとき、成形されるべきポリマーのガラス転移温度よりも僅かに高い温
度状態にある。
　好ましくは、成形面は、上側成形面をポリマー又は最も上側に位置するポリマーの少な
くとも上面に当てるステップの実施中、ポリマーのガラス転移温度よりも高い温度状態に
維持される。
【００２５】
　好ましくは、成形面のうちの少なくとも１つは、表面凹凸を有し、上側成形面を当てる
ステップは、圧力をポリマーに加えてポリマーを成形面の表面凹凸中に押し込む。
【００２６】
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面は、最大約５００ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力
をポリマーに加える。
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面は、最大約２６０ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力
をポリマーに加える。
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面は、最大約６０ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力を
ポリマーに加える。
【００２７】
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面は、約１～２００ｋｇ／ｃｍ2、１～１５０ｋ
ｇ／ｃｍ2、１～１００ｋｇ／ｃｍ2、１～９０ｋｇ／ｃｍ2、１～８０ｋｇ／ｃｍ2、１～
７０ｋｇ／ｃｍ2、１～６０ｋｇ／ｃｍ2、１～５０ｋｇ／ｃｍ2、１～４０ｋｇ／ｃｍ2、
１～３０ｋｇ／ｃｍ2、１～２０ｋｇ／ｃｍ2、１～１０ｋｇ／ｃｍ2、１～９ｋｇ／ｃｍ2

、１～８ｋｇ／ｃｍ2、１～７ｋｇ／ｃｍ2、１～６ｋｇ／ｃｍ2、１～５ｋｇ／ｃｍ2、１
～４ｋｇ／ｃｍ2、１～３ｋｇ／ｃｍ2、１～２ｋｇ／ｃｍ2、１～１．５ｋｇ／ｃｍ2、１
～１．２ｋｇ／ｃｍ2の成形圧力をポリマーに加える。
【００２８】
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面は、約１ｋｇ／ｃｍ2以下の成形圧力をポリマ
ーに加える。
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面は、約０．９ｋｇ／ｃｍ2、０．８ｋｇ／ｃｍ2

、０．７ｋｇ／ｃｍ2、０．６ｋｇ／ｃｍ2、０．５ｋｇ／ｃｍ2、０．４ｋｇ／ｃｍ2、０
．３ｋｇ／ｃｍ2、０．２ｋｇ／ｃｍ2、０．１ｋｇ／ｃｍ2の成形圧力をポリマーに加え
る。
【００２９】
　好ましくは、ポリマーは、熱硬化性又は熱可塑性ポリマーである。
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　好ましくは、ポリマーは、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、汎用ポ
リスチレン（ＧＰＰＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、熱可塑性（ポリ）ウ
レタン（ＴＰＵ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエステルメタクリレー
ト（ＰＥＭ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロ
ニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリエステル（ＰＥＳ）、ポリアミド（ＰＡ）
、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリビニリデンクロリド（ＰＶＤ
Ｃ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリエーテル
エーテルケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（
ウルテム（Ultem））、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、耐衝撃性ポリスチレン、アキロブタルスチ
レン（aquilobutalstyrene）、ナイロン、アクリル樹脂、非晶質ポリマー、ポリエチレン
（ＰＥ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、
超低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、熱可塑性エチレン（ＴＰＥ）、ポリプロピレン（
ＰＰ）、ゴム、フェノール樹脂等のうちから選択された１つである。
【００３０】
　好ましくは、上面は、２つの成形面相互間でのポリマーの運動により圧力をポリマーに
加えるようポリマーに当てられる。
【００３１】
　好ましくは、下側成形面は、コンベヤによって支持される。
　好ましくは、上側成形面は、コンベヤによって支持される。
【００３２】
　好ましくは、下側成形面は、第１のコンベヤにより支持されると共に動かされ、上側成
形面は、第１のコンベヤに隣接して配置された第２のコンベヤによって支持されると共に
動かされ、それにより、第２の成形面を第１の成形面に隣接して位置決めすると共に第１
及び第２の成形面をポリマーが第１の成形面と第２の成形面との間で圧力を受ける圧力ゾ
ーン中に動かす。
【００３３】
　好ましくは、ポリマーは、圧力ゾーンに入る際、そのガラス転移温度よりも高い温度状
態にある。
　好ましくは、第１の成形面及び第２の成形面のうちの少なくとも一方の温度は、圧力ゾ
ーン内で能動的に制御される。
【００３４】
　好ましくは、下側成形面の温度は、圧力ゾーンに入る前に、能動的に制御される。
　好ましくは、下側成形面の温度は、ポリマーを成形面上に被着させた状態に保つのを助
けるほど十分高く、ポリマーが圧力ゾーンに入る前においては、ポリマーのガラス転移温
度よりも高い。
【００３５】
　好ましくは、能動的に制御される熱除去は、ポリマーが圧力ゾーン内に位置していると
き、上側成形面及び下側成形面のうちの少なくとも一方を介してポリマーから起こり、そ
れにより、ポリマーを少なくとも第１及び第２の成形面のうちの少なくとも一方の温度の
制御により、そのガラス転移温度よりも高い温度から圧力ゾーン内におけるそのガラス転
移温度よりも低い温度に転移させる。
【００３６】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、ポリマーを連続的に成形する方法であって
、ガラス転移温度よりも低い温度状態にあるポリマーのシートを第１のモールドの成形面
（以下、「下側成形面」という）に被着させる（好ましくは、このように被着されるシー
ト中の剪断応力又は他の応力を減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で）ステップ
と、ポリマーをそのガラス転移温度よりも高い温度に移行させるステップと、ポリマーを
下側成形面により支持されると共に下側成形面と共に且つそのガラス転移温度よりも高い
温度のままの状態で圧力ゾーン中に前進させるステップとを有し、圧力ゾーンは、下側成
形面及び第２のモールドの成形面（以下、「上側成形面」という）により構成され、この
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上側成形面は、ポリマーがそのガラス転移温度よりも高い温度のままである間、ポリマー
の少なくとも露出面（以下、「上面」という）に接触して圧力を上側成形面と下側成形面
との間のポリマーに加えるよう下側成形面に対して位置決めされており、この方法は、ポ
リマーが圧力ゾーン内に位置している間、ポリマーからの熱の除去を制御してポリマーを
そのガラス転移温度よりも低い温度に転移させるステップを更に有し、しかる後、ポリマ
ーは、成形面から取り出されることを特徴とする方法にある。
【００３７】
　好ましくは、この方法は、大量生産による成形ポリマー向きである。
　好ましくは、この方法は、ポリマーを連続的に成形するための方法である。
【００３８】
　好ましくは、この方法は、ナノスケールサイズのテキスチャ（好ましくは、ナノスケー
ルテキスチャは、０．１～１，０００ｎｍの少なくとも１つの寸法を有する）をポリマー
の表面のうちの少なくとも一方上に形成するために用いられる。
【００３９】
　好ましくは、上側成形面及び下側成形面のうちの少なくとも一方は、ナノスケールサイ
ズの表面テキスチャ（好ましくは、ナノスケールテキスチャは、０．１～１，０００ｎｍ
の少なくとも１つの寸法を有する）を有し、ナノスケールサイズの表面テキスチャは、実
質的に対応のナノスケールサイズの表面テキスチャ（好ましくは、ナノスケールテキスチ
ャは、０．１～１，０００ｎｍの少なくとも１つの寸法を有する）を方法によって成形さ
れるポリマーに与えるようになっている。
【００４０】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、上記方法によって成形されたポリマーフィ
ルム又はシートにある。
【００４１】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、上記ポリマーフィルム又はシートであって
、ナノスケールサイズの表面テキスチャがポリマーフィルム又はシートの表面のうちの少
なくとも一方に設けられている（好ましくは、前記ナノスケールテキスチャは、０．１～
１，０００ｎｍの少なくとも１つの寸法を有する）ことを特徴とするポリマーフィルム又
はシートにある。
【００４２】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、上記方法により成形された非反射性製品に
ある。
【００４３】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、ポリマーを連続的に成形する（好ましくは
、このようにして成形されるポリマーの表面の少なくとも一部にナノスケールサイズの表
面テキスチャを形成するために）装置であって、ポリマー押出し物（好ましくは、液体ポ
リマー押出し物）を連続的に押し出す押出し機を有し、押出し機は、押出しヘッドを含み
、この装置は、押出し物をそのガラス転移温度以上の温度状態で受け入れる成形ゾーンを
更に有し、成形ゾーンは、１つ又は複数の第１のモールドの１つ又は複数の連続的に前進
する成形面（以下、「第１の成形面」という）及び１つ又は複数の第２のモールドの１つ
又は複数の連続的に前進する成形面（以下、「第２の成形面」という）により構成され、
第１の成形面は、好ましくは、ポリマー押出し物が成形ゾーン内に前進する前に、ポリマ
ー押出し物を受け入れて（好ましくは、第１の成形面上に被着させ、例えば、塗被するこ
とにより、且つ好ましくは、このように被着されたポリマー中の剪断応力又は他の応力を
減少させ、ゼロにし又は最小限に抑える仕方で）、ポリマー押出し物を成形ゾーン中に運
び込むよう提供され、
　成形ゾーンは、ポリマー押出し物に
　ａ．圧力を及ぼし、そして
　ｂ．モールドによる成形を施し（好ましくは、ナノスケールサイズの表面テキスチャを
ポリマーの表面の少なくとも一部に与え）、そして
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　ｃ．熱除去を施して（好ましくは能動的に、そして好ましくは熱除去を制御して）ポリ
マーをガラス転移温度よりも低い温度に転移させるよう構成されていることを特徴とする
装置にある。
【００４４】
　好ましくは、能動的熱除去は、少なくとも１つの温度制御ヒートシンクにより第１及び
第２の成形面のうちの少なくとも一方を介して起こる。
【００４５】
　好ましくは、第１及び第２の成形面のうちの少なくとも一方のための複数のヒートシン
クが設けられ、ヒートシンクは、成形ゾーン内において前進向きと後退向きの状態で互い
に対して間隔を置いて配置されている。
【００４６】
　好ましくは、前進した状態のヒートシンクは、ポリマーが成形ゾーンを通って前進して
いるときにポリマーの温度を次第に減少させるために、隣接の後退したヒートシンクより
も低い温度のものである。
【００４７】
　好ましくは、各ヒートシンクの温度を制御するために各ヒートシンクのために温度制御
装置が設けられている。
【００４８】
　好ましくは、第１及び第２の成形面のうちの少なくとも一方は、熱をヒータによって成
形ゾーンの少なくとも開始時にポリマーに伝達することができる。
【００４９】
　好ましくは、第１の成形面は、ポリマーが成形ゾーンに入る前にポリマーを受け入れる
よう提供されている。
　好ましくは、第１の成形面が成形ゾーンに入る前に第１の成形面を加熱するためのヒー
タが設けられている。
【００５０】
　好ましくは、第１及び第２の成形面が成形ゾーンに入る前に第１及び第２の成形面のう
ちの少なくとも一方を加熱するための少なくとも１つのヒータが設けられている。
【００５１】
　好ましくは、ヒータは、ポリマーを少なくとも成形ゾーンの開始時にそのガラス転移温
度よりも高い温度に維持しやすくすることができる。
　好ましくは、ヒータは、少なくともポリマーが成形ゾーンに入る直前に、ポリマーをそ
のガラス転移温度よりも高い温度に維持しやすくすることができる。
【００５２】
　好ましくは、第１及び第２の成形面のうちの少なくとも一方は、ナノサイズの表面テキ
スチャを有し、ナノサイズの表面テキスチャは、ポリマーに実質的に対応したナノサイズ
の表面テキスチャを形成することができる。
【００５３】
　好ましくは、複数個の別々の且つ／或いは連続して前進する第１及び第２の成形面が成
形ゾーンを通って前進することができるよう設けられ、各成形面は、同期速度で対をなし
た関係で成形ゾーン中を前進する。
【００５４】
　好ましくは、成形ゾーンを繰り返し通過する有限の数の又は別々の数の第１及び第２の
成形面が設けられている。
　好ましくは、成形ゾーンを１回だけ通過する有限の数の又は別々の数の第１及び第２の
成形面が設けられている。
　好ましくは、第１及び第２の成形面のうちの少なくとも一方は、各々、連続した形状の
ものである。
【００５５】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、ポリマーを連続的に成形する（好ましくは
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、このようにして成形されるポリマーの表面の少なくとも一部にナノスケールサイズの表
面テキスチャを形成するために）装置であって、ポリマーをポリマーがそのガラス転移温
度よりも高い温度状態で受け入れる成形ゾーンを有し、成形ゾーンは、１つ又は複数の第
１のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する成形面（以下、「第１の成形面」という
）及び１つ又は複数の第２のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する成形面（以下、
「第２の成形面」という）により構成され、下側成形面は、好ましくは、ポリマーが成形
ゾーン中に前進する前に、ポリマーを受け入れてポリマーを成形ゾーン中に運び込むよう
提供され、成形ゾーンは、ポリマー押出し物に
　ａ．圧力を及ぼし、そして
　ｂ．モールドによる成形を施し（好ましくは、ナノスケールサイズの表面テキスチャを
ポリマーの表面の少なくとも一部に与え）、そして
　ｃ．熱除去を施して（好ましくは能動的に、そして好ましくは熱除去を制御して）ポリ
マーをガラス転移温度よりも低い温度に転移させるよう構成されていることを特徴とする
装置にある。
【００５６】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、ポリマーを連続的に成形する（好ましくは
、このようにして成形されるポリマーの表面の少なくとも一部にナノスケールサイズの表
面テキスチャを形成するために）装置であって、同時押出し形態の少なくとも２種類のポ
リマーの押出し物を形成する少なくとも１つの押出し機と、押出し物を少なくとも１つ、
好ましくは両方の／全てのポリマーがそれぞれのガラス転移温度よりも高い温度状態にあ
る状態で受け入れる成形ゾーンとを有し、成形ゾーンは、１つ又は複数の第１のモールド
の１つ又は複数の連続的に前進する成形面（以下、「第１の成形面」という）及び１つ又
は複数の第２のモールドの１つ又は複数の連続的に前進する成形面（以下、「第２の成形
面」という）により構成され、
【００５７】
　第１の成形面は、好ましくは、ポリマーが成形ゾーン中に前進する前に、ポリマーを受
け入れてポリマーを成形ゾーン中に運び込むよう提供され、成形ゾーンは、ポリマー押出
し物に
　ａ．圧力を及ぼし、そして
　ｂ．モールドによる成形を施し（好ましくは、ナノスケールサイズの表面テキスチャを
ポリマーの表面の少なくとも一部に与え）、そして
　ｃ．熱除去を施して（好ましくは能動的に、そして好ましくは熱除去を制御して）ポリ
マーをガラス転移温度よりも低い温度に転移させるよう構成されていることを特徴とする
装置にある。
　好ましくは、押出し機は、ポリマーの各種類について設けられている。
【００５８】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、上記装置により成形されたナノサイズの表
面テキスチャを備えたポリマーにある。
【００５９】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、連続的に成形されたナノサイズの表面テキ
スチャを備えた材料にある。
【００６０】
　別の態様は、本発明の要旨は、広義には、少なくとも２種類のポリマーを含む連続成形
同時押出し材料であって、少なくとも１種類のポリマーがナノサイズの表面テキスチャを
含むことを特徴とする材料にある。
【００６１】
　別の態様は、本発明の要旨は、広義には、ナノサイズの表面テキスチャを備えたポリマ
ーの連続成形方法にある。
【００６２】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、少なくとも２種類のポリマーを含む同時押
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出し材料の連続成形方法であって、ポリマーのうちの少なくとも１種類がナノサイズの表
面テキスチャを含むことを特徴とする方法にある。
【００６３】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、少なくとも１種類のポリマー（及び好まし
くは少なくとも２種類の同時押出しポリマー）のシート又はフィルムであって、少なくと
も１種類の前駆物質としてのポリマー材料の連続又は非個別的又は非有限的加工により形
成されたナノサイズの表面テキスチャを含むことを特徴とするシート又はフィルムにある
。
【００６４】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、少なくとも１種類のポリマー（及び好まし
くは少なくとも２種類の同時押出しポリマー）の単一シート又はフィルムであって、連続
又は非個別的又は非有限的加工により成形されたナノサイズの表面テキスチャの複数の同
一及び繰り返しゾーンを含むことを特徴とする単一シート又はフィルムにある。
【００６５】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、少なくとも１種類のポリマー（及び好まし
くは少なくとも２種類の同時押出しポリマー）の複数の個別のシート又はフィルムであっ
て、各シート又はフィルムが、連続又は非個別的又は非有限仕方で成形された単一シート
又はフィルム前駆物質から分離された同一のナノサイズの表面テキスチャを含むことを特
徴とするシート又はフィルムにある。
【００６６】
　好ましくは、下側成形面は、第１の又は下側の定盤に取り付けられる。好ましくは、上
側成形面は、第２の又は上側の定盤に取り付けられる。好ましくは、成形面は、１つ又は
２つ以上のナノ又は近ナノ又はミクロン又は近ミクロンサイズの表面凹凸又はプロフィー
ルで構成されている。
【００６７】
　好ましくは、上側成形面を当てるステップは、上側成形面を上側のポリマーの少なくと
も最も上側の表面に接触させるステップを含む。
【００６８】
　好ましくは、ポリマーは、そのポリマーガラス転移温度よりも高い温度状態になると、
下側成形面及び上側成形面の形状を取る。
【００６９】
　好ましくは、ガラス転移温度よりも高い温度に加熱されるポリマーは、押出しにより押
出しヘッドに送られて下側成形面上に流れる。より好ましくは、メルトポンプがポリマー
の流量を制御する。
【００７０】
　好ましくは、ポリマーは、ガラス転移温度よりも高い温度状態にあるとき、液相の状態
にある。
【００７１】
　好ましくは、成形面は、成形されるべきポリマーのガラス転移温度に実質的に等しく又
はこれに近い若しくはこれよりも高い温度で提供される。より好ましくは、成形面は、上
側成形面を最も上側に位置するポリマーの少なくとも上面に当てるステップの実施中、実
質的にポリマーのガラス転移温度よりも高い温度又はこれに近い温度状態に維持される。
最も好ましくは、成形面は、成形されるべきポリマーのガラス転移温度よりも少なくとも
高い温度状態にあるよう制御可能である。
【００７２】
　好ましくは、成形（ダイ）面は、熱伝導性である。好ましくは、他の成形（ダイ）面よ
りも比較的高い熱伝導率を持つ成形（ダイ）面を用いるのが良い。好ましくは、成形面は
、ニッケル、スチール（鋼）、アルミニウム、カーボンのうちの１つ又は２つ以上である
。好ましくは、成形（ダイ）面は、３次元成形面である（即ち、平面状ではない）。
【００７３】
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　好ましくは、下側成形面へのポリマー材料の流動の際にニヤネットシェイプが形成され
る。好ましくは、ニヤネットシェイプは、上側成形面を最も上側のポリマーの少なくとも
上面に当てた際に形成される。
【００７４】
　好ましくは、上側成形面を当てるステップは、ポリマーをダイ表面中に押し込む圧力を
ポリマーに及ぼす。より好ましくは、上側成形面を当てるステップは、成形面から空気を
除去するのを助け、それにより、ポリマーは、成形面中に流れ込むことができる。
【００７５】
　好ましくは、成形されるべき材料又はポリマーがこれらのガラス転移温度よりも高い温
度のままである間に圧力が加えられる。
【００７６】
　好ましくは、上側成形面は、最大約５００ｋｇ／ｃｍ2までの、オプションとして最大
約２６０ｋｇ／ｃｍ2まで、オプションとして最大約６０ｋｇ／ｃｍ2までの成形圧力を及
ばし、オプションとして、この成形圧力は、約１～２００ｋｇ／ｃｍ2、１～１５０ｋｇ
／ｃｍ2、１～１００ｋｇ／ｃｍ2、１～９０ｋｇ／ｃｍ2、１～８０ｋｇ／ｃｍ2、１～７
０ｋｇ／ｃｍ2、１～６０ｋｇ／ｃｍ2、１～５０ｋｇ／ｃｍ2、１～４０ｋｇ／ｃｍ2、１
～３０ｋｇ／ｃｍ2、１～２０ｋｇ／ｃｍ2、１～１０ｋｇ／ｃｍ2、１～９ｋｇ／ｃｍ2、
１～８ｋｇ／ｃｍ2、１～７ｋｇ／ｃｍ2、１～６ｋｇ／ｃｍ2、１～５ｋｇ／ｃｍ2、１～
４ｋｇ／ｃｍ2、１～３ｋｇ／ｃｍ2、１～２ｋｇ／ｃｍ2、１～１．５ｋｇ／ｃｍ2、１～
１．２ｋｇ／ｃｍ2である。変形例として、加えられる圧力は、約１ｋｇ／ｃｍ2以下であ
っても良く、オプションとして、約０．９ｋｇ／ｃｍ2、０．８ｋｇ／ｃｍ2、０．７ｋｇ
／ｃｍ2、０．６ｋｇ／ｃｍ2、０．５ｋｇ／ｃｍ2、０．４ｋｇ／ｃｍ2、０．３ｋｇ／ｃ
ｍ2、０．２ｋｇ／ｃｍ2、０．１ｋｇ／ｃｍ2である。
【００７７】
　好ましくは、ポリマーが成形面の形状を取った後に、ポリマーの冷却及び／又はスキン
ニングが起こり始める。例えば、冷却及び／又はスキンニングは、上側成形面を当てるス
テップの実施後であって上側成形面が成形圧力を及ぼした後に起こり始める。
【００７８】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、ナノスケール又は近ナノスケールの表面細
部を備えた１つ又は複数の表面を有するようアイテムを成形する方法であって、成形可能
な材料を流動又は塗被又は被着により表面上に塗布するステップと、材料を成形するステ
ップとを有する方法にある。
【００７９】
　別の態様では、本発明の要旨は、広義には、ナノサイズの表面凹凸を含む少なくとも１
つの表面を備えたアイテムを成形する方法であって、第１の定盤の表面上に成形されるべ
き前駆物質の１つ又は複数の層を被着させるステップを有し、この前駆物質は、被着時に
、溶融状態又はオプションとして近溶融状態又は少なくとも非剛性状態であり、第２の定
盤を第１の定盤に向かって変位させることにより圧力を前駆物質層に加えて前駆物質を少
なくとも部分的に成形するステップを有し、一方又は両方の定盤は、前駆物質に少なくと
も部分的にそのネガを与えるようナノサイズの表面凹凸を含む表面を支持し又は有するこ
とを特徴とする方法にある。
【００８０】
　好ましくは、この方法は、前駆物質が応力弛緩又は減少状態にあるときに前駆物質を塗
布するステップを含む。
【００８１】
　好ましくは、前駆物質は、流動性材料であるのが良い。さらにより好ましくは、前駆物
質は、実質的に溶融又は半溶融状態にあり又はそれに近い状態にあるのが良い。最も好ま
しくは、前駆物質は、その液相の状態にあるのが良い。
【００８２】
　好ましくは、前駆物質を表面に塗布するステップは、前駆物質を流動させることによっ
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て実施されるのが良い。
【００８３】
　好ましくは、前駆物質は、約５０ｍｍ、４０ｍｍ、３０ｍｍ、２０ｍｍ、１０ｍｍ以下
、より好ましくは約５ｍｍ以下、更により好ましくは、約３ｍｍ以下、最も好ましくは約
２ｍｍ以下の厚さまで表面に塗布されるのが良い。さらにより好ましくは、前駆物質は、
約０．１ｍｍ～約３ｍｍの深さまで表面に塗布されるのが良い。変形例として、この深さ
は、約４ｍｍ又は３ｍｍ又は２ｍｍ又は１ｍｍである。
【００８４】
　変形例として、表面に塗布される材料の深さは、少なくとも約０．５マイクロメートル
、１マイクロメートル、２マイクロメートル、３マイクロメートル、４マイクロメートル
５マイクロメートル、６マイクロメートル、７マイクロメートル、８マイクロメートル、
９マイクロメートル、１０マイクロメートル、１５マイクロメートル、２０マイクロメー
トル、２５マイクロメートル、３０マイクロメートル、３５マイクロメートル、４０マイ
クロメートル、４５マイクロメートル、５０マイクロメートル、５５マイクロメートル又
は約５６マイクロメートル、６０マイクロメートル、６５マイクロメートル、７０マイク
ロメートル、７５マイクロメートル、８０マイクロメートル、８５マイクロメートル、９
０マイクロメートル、９５マイクロメートル、１００マイクロメートル、１０５マイクロ
メートル、１１０マイクロメートル、１１５マイクロメートル、１２０マイクロメートル
、１２５マイクロメートル、１３０マイクロメートル、１３５マイクロメートル、１４０
マイクロメートル、１４５マイクロメートル、１５０マイクロメートル、１５５マイクロ
メートル、１６０マイクロメートル、１６５マイクロメートル、１７０マイクロメートル
、１７５マイクロメートル、１８０マイクロメートル、１８５マイクロメートル、１９０
マイクロメートル、１９５マイクロメートル、２００マイクロメートル、２２０マイクロ
メートル、２４０マイクロメートル、２６０マイクロメートル、２８０マイクロメートル
、２９０マイクロメートル、３００マイクロメートル、３５０マイクロメートル、４００
マイクロメートル、４５０マイクロメートル、５００マイクロメートル、５５０マイクロ
メートル、６００マイクロメートル、６５０マイクロメートル、７００マイクロメートル
、７５０マイクロメートル、８００マイクロメートル、８５０マイクロメートル、９００
マイクロメートル、９５０マイクロメートル、１，０００マイクロメートル、１，０５０
マイクロメートル、１，１００マイクロメートル、１，１５０マイクロメートル、１，２
００マイクロメートル、１，２５０マイクロメートル、１，３００マイクロメートル、１
，３５０マイクロメートル、１，４００マイクロメートル、１，４５０マイクロメートル
、１，５００マイクロメートル、１，５５０マイクロメートル、１，６００マイクロメー
トル、１，６５０マイクロメートル、１，７００マイクロメートル、１，７５０マイクロ
メートル、１，８００マイクロメートル、１，８５０マイクロメートル、１，９００マイ
クロメートル、１，９５０マイクロメートル、２，０００マイクロメートル、２，０５０
マイクロメートル、２，１００マイクロメートル、２，１５０マイクロメートル、２，２
００マイクロメートル、２，２５０マイクロメートル、２，３００マイクロメートル、２
，３５０マイクロメートル、２，４００マイクロメートル、２，４５０マイクロメートル
、２，５００マイクロメートル、２，５５０マイクロメートル、２，６００マイクロメー
トル、２，６５０マイクロメートル、２，７００マイクロメートル、２，７５０マイクロ
メートル、２，８００マイクロメートル、２，８５０マイクロメートル、２，９００マイ
クロメートル、２，９５０マイクロメートル、３，０００マイクロメートル、３，５００
マイクロメートル、３，５５０マイクロメートル、３，６００マイクロメートル、３，６
５０マイクロメートル、３，７００マイクロメートル、３，７５０マイクロメートル、３
，８００マイクロメートル、３，８５０マイクロメートル、３，９００マイクロメートル
、４，０００マイクロメートル、４，０５０マイクロメートル、４，１００マイクロメー
トル、４，１５０マイクロメートル、４，２００マイクロメートル、４，２５０マイクロ
メートル、４，３００マイクロメートル、４，３５０マイクロメートル、４，４００マイ
クロメートル、４，４５０マイクロメートル、４，５００マイクロメートル、４，５５０
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マイクロメートル、４，６００マイクロメートル、４，６５０マイクロメートル、４，７
００マイクロメートル、４，７５０マイクロメートル、４，８００マイクロメートル、４
，８５０マイクロメートル、４，９００マイクロメートル、４，９５０マイクロメートル
、５，０００マイクロメートル又は０．１ミリメートル～約３ミリメートルの深さである
のが良く、有用な範囲は、これらの値のうちの任意の値相互間（例えば、約０．５ミリメ
ートル～約３ミリメートル、約０．２ミリメートル～約２ミリメートル）から選択される
のが良い。
【００８５】
　好ましくは、前駆物質は、ダイからいったん取り出された材料又は製品のインプリント
表面の再熱が最小限に抑えられるような深さまで表面に塗布されるのが良い。
　好ましくは、表面に塗布される材料の深さが少なければ少ないほど、行う必要のある成
形（圧縮又はインプリント）プロセスがそれだけ一層速くなると共にこのように形成され
るアイテム又は製品の冷却時間がそれだけ一層短くなる。
【００８６】
　好ましくは、成形のための材料は、基板に塗布され、次に、基板は、成形のために表面
又は定盤上に配置される。この基板は、任意深さのものであって良い。塗布される材料の
深さは、任意深さであっても良く、成形方法は、ナノスケールインプレッション又はパタ
ーンを材料にインプリントする。
【００８７】
　好ましくは、材料がポリスチレンである場合、その温度は、表面との接触時に約２３０
℃であるように制御されるのが良い。
【００８８】
　好ましくは、材料がポリカーボネートである場合、その温度は、表面との接触時に約３
００℃であるように制御されるのが良い。
【００８９】
　好ましくは、材料は、所定の材料の流動学的性質に従って温度制御されるのが良い。例
えば、材料は、表面への材料の流動を可能にする溶融又は半溶融状態又は液体状態に達す
るようにするのが良い。
【００９０】
　好ましくは、材料は、温度制御されると共に貯まるようにし、その後、貯まった材料を
流動により表面に塗布するのが良い。変形例では、材料は、実質的にシートの形態で表面
に提供されるのが良い。例えば、材料は、オプションとしてメルトポンプを含む押出しシ
ステムからの押出し物（即ち、連続流動体）であるのが良い。
【００９１】
　好ましくは、材料は、ガラス転移温度よりも高い温度に加熱され、成形面上に制御され
た仕方で連続して流れることができる材料（この材料は、液相である）、溶融成形可能材
料、熱成形可能な温度で塗布される熱成形可能な材料、表面又は１つ若しくは複数の成形
ツールにより成形可能な状態まで加熱される熱成形可能な材料、表面又は１つ若しくは複
数のツール等により冷却される熱成形可能な材料又は溶融成形可能材料、表面又は１つ若
しくは複数の成形ツールにより熱硬化されるべき熱成形可能な材料及び異なる性質の１種
類又は２種類以上の材料と組み合わされた上記材料のうちの任意のものの中の１つ又は２
つ以上であるのが良い。一実施形態では、材料を近溶融状態でダイ表面上に流動させ、ダ
イ表面上に位置している状態で加熱して材料をそのガラス転移温度よりも高い温度に昇温
させ、それによりこの材料は、その液相の状態で用いられると、モールドの形状を取るこ
とができる。
【００９２】
　好ましくは、材料は、熱硬化性ポリマー又は熱可塑性ポリマーから選択されるのが良い
。
　好ましくは、材料は、熱成形可能な温度で表面に塗布されるのが良い。
　好ましくは、材料は、ポリマー複合材であるのが良い。
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【００９３】
　好ましくは、材料は、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、汎用ポリス
チレン（ＧＰＰＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、熱可塑性（ポリ）ウレタ
ン（ＴＰＵ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエステルメタクリレート（
ＰＥＭ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、耐衝撃性ポリスチレン（ＨＩＰＳ）、アクリロニト
リルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリエステル（ＰＥＳ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポ
リ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリビニリデンクロリド（ＰＶＤＣ）
、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリエーテルエー
テルケトン（ＰＥＥＫ）（ポリエーテルケトン）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（ウル
テム（Ultem））、ポリ乳酸（ＰＬＡ）であるのが良い。
【００９４】
　本発明の成形方法に使用できる別の例示の材料は、次の通りである。用いることができ
る種々の熱成形可能な材料は、例えば、ポリスチレン（ＰＳ）、耐衝撃性ポリスチレン、
ポリカーボネート（ＰＣ）、アキロブタルスチレン（aquilobutalstyrene：ＡＢＳ）、ナ
イロン及び全てのアクリル樹脂であるが、これらには限定されず、又、結晶ポリマーに限
定されるわけでもない。種々の薄手のプラスチック材料、例えば、非晶質ポリマーを用い
ることができるが、これには限定されず、又、種々の薄手のプラスチック材料は、例えば
、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、低密度ポリエチレン
（ＬＤＰＥ）、超低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、熱可塑性ウレタン（ＴＰＵ）、熱
可塑性エチレン（ＴＰＥ）及びポリプロピレン（ＰＰ）であっても良い。例えば、ポリプ
ロピレンが１～２０個の層をなして機械中に送り込まれるのが良く、この場合、例えばプ
レート及びボウル又は形成される類似の皿状又は異形材料の形態をした適当な材料が定位
置に位置しているのが良い。
【００９５】
　好ましくは、材料は、光材料、例えば、次の材料、即ち、紫外線安定化熱可塑性ポリウ
レタン（ＴＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）
、汎用ポリスチレン（ＰＳ）のうちの任意の１つ又は２つ以上であって良い。光材料は、
例えば、光学レンズとして適した材料であるのが良い。
【００９６】
　好ましくは、多種多様な材料を本発明の成形方法において流動可能に供給して用いるこ
とができる。例えば、別の適当な材料としては、例えば成形ゾーンにおいて成形作業の圧
力の影響を受け又は作用を受けることができる材料が挙げられる。このような作用は、圧
力及び／又は熱の作用により触媒され、作られ又は生じるのが良いが、最終結果として、
成形のための材料のうちの少なくとも１つの材料には成形変化が与えられる。別の実施例
では、延性材料、例えば板金を種々の材料がこの上下に位置した状態で送り込んでも良く
、かくして、金属材料又は展性材料が圧力成形ゾーン内で所望の形状に成形され、これは
、他の材料が圧力成形ゾーンの影響を受けるかどうかとは無関係であり、ただし、この場
合、少なくともその１つの材料、例えば、半溶融板金が溶融又は半溶融状態にあるのが良
いことを条件とする。
【００９７】
　成形可能な材料の基本的な成分は、圧力だけを受けて形状を保持し又は形状を取り又は
インプリントする材料（例えば、展性又は延性材料、例えば鉛、銅、亜鉛等、プラスチッ
ク等）、成形可能であるためには熱を必要とする熱可塑性化合物、成形可能であるために
は圧力に加えて熱又は触媒の他の何らかの形態を必要とする熱硬化性化合物又は一般に、
成形可能であるためには熱及び圧力を必要とする熱成形可能な化合物である。一例として
、ゴムを圧力成形するのが良いが、熱を加えると、ゴム分子の架橋を一段と容易にするこ
とができ、その結果、いったん圧力及び熱を除くと、ゴム材料に与えられた形状が保持さ
れるようになる。
【００９８】
　他の材料では、材料を成形するのは圧力であると共に材料を例えば熱硬化性材料中で分
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離するのは熱であるのが良く、或いは触媒として熱を必要とする２種類又は３種類以上の
材料が存在する。例えば、予備含浸炭素繊維の供給材料は、このような１種類の金属であ
って良く、圧力を加えると材料が成形され、熱を加えると材料が分離されると共にマトリ
ックス又はエポキシが硬化する。
【００９９】
　好ましい材料は、材料又は材料の成分を液相にすることができる（即ち、この材料のガ
ラス転移温度Ｔgよりも高い温度にすることができる）よう加熱可能な材料である。冷却
時（即ち、材料のガラス転移温度Ｔgよりも低い温度に温度を下げたとき）、材料は、固
化（結晶化）し、それにより、材料が液相状態で流し込まれたモールドの形状又は表面凹
凸パターンを保持する。
【０１００】
　好ましくは、材料は、導電性ポリマーの一部であるのが良く、又は導電性ポリマーであ
るのが良い。
【０１０１】
　好ましくは、材料は、ポリマー創傷被覆材の一部であるのが良く又はポリマー創傷被覆
材であるのが良い。
【０１０２】
　好ましくは、成形された製品は、金属化処理を受けるのが良い。より好ましくは、金属
化処理を受けた成形された製品は、例えば溶解によって除去される成形材料（ポリマー）
を有することができ、結果的に得られる金属構造は、成形された製品の表面のネガの細部
を有する。
【０１０３】
　好ましくは、このようにして成形された製品は、反射防止性のものであって良く又は極
めて非反射性の表面凹凸構造体であって良い。
【０１０４】
　好ましくは、表面は、成形ゾーンの一部に提供され又は成形ゾーンの一部をなす。好ま
しくは、成形ゾーンは、圧力成形ゾーンである。
【０１０５】
　好ましくは、表面は、成形ブロックの表面の一部をなすのが良い。好ましくは、表面は
、成形ツール又はダイ又はインプリンタの一表面であるのが良い。好ましくは、表面は、
プレス又は成形ツールの一定盤である。
【０１０６】
　好ましくは、表面は、連続成形ツール（ＣＦＴ）の一部である。好ましくは、表面は、
可動ベルトフォーマ（ＭＢＦ）の一部である。
【０１０７】
　好ましくは、成形は、インプリントを含むのが良い。好ましくは、ダイは、インプリン
タダイであるのが良い。
【０１０８】
　好ましくは、材料を成形するための成形ツール又はダイ又はインプリント表面は、１つ
又は２つ以上の金属被覆ナノチューブから成る。より好ましくは、金属被覆ナノチューブ
は、成形されるべき所定の製品に従って配置され又は構成される。最も好ましくは、成形
面は、ニッケルダイ表面である。
【０１０９】
　好ましくは、表面は、プレスの一方の定盤であり、プレスは、所望のパターンを材料中
にインプリントし又はプレスする適当なトポロジーの対向した定盤を有する。
【０１１０】
　好ましくは、トポロジーは、プロフィールである。好ましくは、定盤のうちの一方又は
両方は、材料上に成形されるべきナノスケールの表面細部を備えた表面を含み又はこれを
備える。
【０１１１】
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　好ましくは、材料は、表面への塗布前に温度制御されるのが良い。好ましくは、材料は
、表面への塗布時に温度制御されるのが良い。
【０１１２】
　好ましくは、材料は、表面への塗布前に温度制御されると共に表面への塗布時に温度制
御されるのが良い。
【０１１３】
　さらに別の観点では、本発明の要旨は、広義には、以下の形式のアイテム、即ち、例え
ば水、化学薬品、ガス、血液から又はこれらの中の成分の分離のための分離膜又は燃料電
池内での分離膜の使用、センサ装置、光ディフューザ、光エミッタ、波反射又は吸収装置
、例えばレーダ等、電子回路又は電子回路部品、粒子アライメント又は位置合わせ技術、
撥水材又は撥水技術、例えば疎水性材料、光媒体、例えば液晶ディスプレイ（“ＬＣＤ”
）又はコンパクトディスク（“ＣＤ”）又はディジタルビデオディスク（“ＤＶＤ”）技
術又は光電池、記憶装置、医療器具、例えば皮膚修復又は創傷修復器具（例えば、包帯）
、薬剤運搬機構体又は装置、減少（低）摩擦性表面材料、増大（高）摩擦性表面材料、積
層技術、無線認証（“ＲＦＩＤ”）チップ、導電性ポリマー層／製品／回路、光曲げ技術
、例えばネガティブ光反射、後で金属化される反射防止面又は二次成形表面構造体、この
ような構造体から取り出された二次成形製品材料のうちの１つ又は２つ以上を形成するよ
う上述の観点のうちの任意の１つに従って構成された方法にある。
【０１１４】
　さらに別の観点では、本発明の要旨は、広義には、互いに向かって押し付けられる少な
くとも１つの他の定盤と関連して形成されるべきプレスの一方の定盤に塗被され又は塗布
される前駆物質から形成された以下のアイテムの１つ又は２つ以上にあり、このようなア
イテムは、例えば、例えば水、化学薬品、ガス、血液から又はこれらの中の成分の分離の
ための分離膜又は燃料電池内での分離膜の使用、センサ装置、光ディフューザ、光エミッ
タ、波反射又は吸収装置、例えばレーダ等、電子回路又は電子回路部品、粒子アライメン
ト又は位置合わせ技術、撥水材又は撥水技術、例えば疎水性材料、光媒体、例えば液晶デ
ィスプレイ（“ＬＣＤ”）又はコンパクトディスク（“ＣＤ”）又はディジタルビデオデ
ィスク（“ＤＶＤ”）技術又は光電池、記憶装置、医療器具、例えば皮膚修復又は創傷修
復器具（例えば、包帯）、薬剤運搬機構体又は装置、減少（低）摩擦性表面材料、増大（
高）摩擦性表面材料、積層技術、無線認証（“ＲＦＩＤ”）チップ、導電性ポリマー層／
製品／回路、光曲げ技術、例えばネガティブ光反射、後で金属化される反射防止面又は二
次成形表面構造体、このような構造体から取り出された二次成形製品材料であるのが良い
。
【０１１５】
　好ましくは、形成されるアイテムは、光媒体であるのが良く、このような光媒体として
は、光電池、コンパクトディスク（ＣＤ）、ディジタルビデオディスク（ＤＶＤ）のうち
の１つ又は２つ以上が挙げられる。好ましくは、形成されるアイテムは、液晶ディスプレ
イ（“ＬＣＤ”）を含む光媒体であるのが良い。好ましくは、形成されるアイテムは、導
電性回路の一要素であるのが良い。
【０１１６】
　好ましくは、定盤のうちの一方又は両方は、前駆物質上に形成されるべきミクロンスケ
ール又はナノスケールサイズの表面細部を備えた表面を有し又は支持する。
【０１１７】
　本発明を利用できる改良型成形方法を記載した国際出願ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００
３０１号を参照により引用し、その記載内容を本明細書の一部とする。また、本発明を利
用できる改良型成形装置を記載した国際出願ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００３００号を参
照により引用し、その記載内容を本明細書の一部とする。
【０１１８】
定義
【０１１９】
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　本明細書で用いられる「ナノスケール」又は「ナノ」は、以下の意味を有し、即ち、０
．１～１，０００ナノメートルの１つ又は２つ以上の寸法を有する。
【０１２０】
　「液相」は、固体又は気体以外の材料の相である。すなわち、この材料の相は、液体で
ある。液相は、分子又は原子の熱的易動度が凝集性と同等であり、分子又は原子を互いに
結合するが、物体中では流動性にする物質の３つの基本的な構造的状態のうちの１つであ
る。
【０１２１】
　本明細書で用いられる「溶融」という用語は、次の意味を有し、即ち、典型的には例え
ば最小の特定温度、例えば融点まで熱を加えることによる材料の内部エネルギーの増大が
材料の物理的性質又は状態を固相から液相に変化させる材料の物理的性質を有する。
【０１２２】
　本明細書で用いられる「半溶融」という用語は、次の意味を有し、即ち、材料が固相の
物理的性質又は状態と「溶融」状態又は「液相」の物理的性質又は状態との間の物理的性
質又は状態を有する。
【０１２３】
　原文名細書において用いられる“comprising”という用語（翻訳文では、「～を有する
」又は「～を含む」と訳出されている場合が多い）は、“consisting at least in part 
of”（少なくとも一部が～から成る）を意味している。“comprising”という用語を含む
原文明細書における各記載を解釈する場合、この用語の前に位置する１つ又は複数の特徴
以外の特徴も又存在する場合がある。例えば“compose”及び“comprises”という関連用
語は、同様に解釈されるべきである。
【０１２４】
　本発明の要旨は又、本願の明細書において個々に又はひとまとめに言及され又は示され
た部品、要素及び特徴部並びに任意の２つ又は３つ以上のこれら部品、要素又は特徴部の
任意の組み合わせ又は全ての組み合わせにあるといえ、本発明と関連した技術における公
知の均等例を有する特定の整数が本明細書において言及されている場合、このような公知
の均等例は、あたかも個々に記載されているかのように本明細書に組み込まれていると考
えられる。
【０１２５】
　本発明の要旨は、上記内容にあり、又、以下において例示を示すに過ぎない構成を想定
している。
【０１２６】
　次に、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施形態について説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明に従って成形された液相状態にあるポリマーの流れを示すナノサイズ走査
型電子顕微鏡画像を示す図である。
【図２】図１に示された製品の原子間力顕微鏡測定結果を示す図である。
【図３】図１に示された製品の一部の原子間力顕微鏡画像を示す図である。
【図４】本発明に従って成形されたナノスケール製品のナノ／ミクロンサイズ（ＤＶＤ）
走査型電子顕微鏡画像を示す図である。
【図５】図４に示された製品の原子間力顕微鏡測定結果を示す図である。
【図６】本発明の成形法のステージ間で成形されるべき材料の温度のグラフ図である。
【図７】単一の押出し物が下側成形面上に流れている状態の押出しヘッドの側面図である
。
【図８】図７の実施形態の斜視図である。
【図９】上側成形面が現場の形態を取っている状態の図７及び図８の実施形態を示す図で
ある。
【図１０】図９の実施形態の斜視図である。
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【図１１】図８に類似した斜視図であるが、単一の押出しヘッドが２種類の押出し物を下
側成形面上に流している状態を示す図である。
【図１２】２種類の押出し物が１対の押出しヘッドから下側成形面上に流され、上側成形
面が本発明に従って多数の材料層の被着のために現場に位置した状態で示された図１１の
形態の変形実施形態を示す図である。
【図１３ａ】対応の図１３ｂに示された成形パターン製品を生じさせるために用いられる
成形面のＳＥＭ画像を示す図である。
【図１３ｂ】成形されたパターン製品を示す図である。
【図１４ａ】対応の図１４ｂに示された成形パターン製品を生じさせるために用いられる
成形面のＳＥＭ画像を示す図である。
【図１４ｂ】成形されたパターン製品を示す図である。
【図１５ａ】対応の図１５ｂに示された成形パターン製品を生じさせるために用いられる
成形面のＳＥＭ画像を示す図である。
【図１５ｂ】成形されたパターン製品を示す図である。
【図１６】特定の成形面の概略的形態を示す図である。
【図１７】図１６の成形面上に流されているポリマー及び本発明に従って成形された製品
のＳＥＭ画像を示す図である。
【図１８】図１６の成形面上に流されているポリマー及び本発明に従って成形された製品
のＳＥＭ画像を示す図である。
【図１９】図１６の成形面上に流されているポリマー及び本発明に従って成形された製品
のＳＥＭ画像を示す図である。
【図２０】図１６の成形面上に流されているポリマー及び本発明に従って成形された製品
のＳＥＭ画像を示す図である。
【図２１】図１６の成形面上に流されているポリマー及び本発明に従って成形された製品
のＳＥＭ画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１２８】
　次に、図を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。
【０１２９】
　本発明は、成形可能な材料が流動可能な形態で又は成形作業向きの条件又は状態で提供
された場合に成形可能な材料を成形する方法を提供する上で顕著な利点を提供する。製品
加工ライン速度を成形製品の品質を落とさないで大幅に増大させることができる。さらに
、本発明は、高品質再現性及び高いデフィニションの製品の成形を想定している。
【０１３０】
　本発明の最大加工速度に関する制限要因は、或る程度の精度を持って、成形面への成形
されるべき材料の供給速度及び流量を制御できるかどうかであると予想される。理解され
るように、押出し物の流量制御の向上は、当然のことながら高い加工速度の実現を一段と
可能にする。
【０１３１】
　本発明の第１の実施形態では、ポリマーの成形方法であって、成形されるべきポリマー
をそのガラス転移温度（Ｔg）よりも高い温度まで加熱するステップと、ポリマーＰ（ａ
）を下側成形面２上に連続的に流すステップとを有し、ポリマーＰ（ａ）は、ガラス転移
温度よりも高い温度のままであり、更に、ポリマーＰ（ａ）がガラス転移温度よりも高い
温度を保っている間、上側成形面３をポリマーＰ（ａ）の少なくとも上面３ａに当てるス
テップと、ポリマーＰ（ａ）が成形面２，３内に又はこれら相互間に保持された状態でガ
ラス転移温度よりも低い温度に転移できるようにするステップとを更に有する方法が提供
される。次に、このようにして成形されたポリマーＰ（ａ）は、成形面２，３から取り出
される。
【０１３２】
　本発明の第２の実施形態では、ポリマーの成形方法であって、第１のポリマーＰ（ａ）
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及び第２のポリマーＰ（ｂ）の各々をそれぞれのガラス転移温度（Ｔg）よりも高い温度
状態に加熱するステップと、ポリマーのうちの第１のポリマーＰ（ａ）を下側成形面２上
に連続的に流すステップとを有し、第１のポリマーＰ（ａ）は、そのガラス転移温度より
も高い温度のままであり、更に、ポリマーのうちの第２のポリマーＰ（ｂ）を第１のポリ
マーＰ（ａ）上面３ａ上に連続的に流すステップを有し、第２のポリマーＰ（ｂ）は、そ
のガラス転移温度よりも高い温度のままであり、更に、ポリマーＰ（ａ），Ｐ（ｂ）がそ
れぞれのガラス転移温度よりも高い温度を保っている間、上側成形面３を少なくとも第２
のポリマーの上面３ｂに当てるステップと、ポリマーＰ（ａ），Ｐ（ｂ）が成形面２，３
内に又はこれら相互間に保持された状態でそれぞれのガラス転移温度よりも低い温度に転
移できるようにするステップとを有する方法が提供される。次に、このようにして成形さ
れたポリマーＰ（ａ），Ｐ（ｂ）は、成形面から取り出される。
【０１３３】
　本発明の第３の実施形態では、多種類のポリマーを成形する方法であって、多種類のポ
リマーの各々を各ポリマーのそれぞれのガラス転移温度よりも高い温度まで加熱するステ
ップと、ポリマーのうちの第１のポリマーＰ（ａ）を下側成形面２上に連続的に流すステ
ップとを有し、第１のポリマーＰ（ａ）は、そのガラス転移温度よりも高い温度のままで
あり、更に、ポリマーのうちの第２のポリマーＰ（ｂ）を第１のポリマーＰ（ａ）の上面
３ａ上に連続的に流すステップを有し、第２のポリマーＰ（ｂ）は、そのガラス転移温度
よりも高い温度のままであり、更に、１種類又は２種類以上の別のポリマーを各別のポリ
マーＰ（ｘ）（図示せず）の上面３ｘ（図示せず）上に連続的に流すステップを有し、別
のポリマーの各々は、それぞれのガラス転移温度よりも高い温度のままであり、更に、ポ
リマーの各々がそれぞれのガラス転移温度よりも高い温度を保っている間、上側成形面３
を少なくとも最も上側に位置するポリマーＰ（ｘ）の上面３ｘに当てるステップと、ポリ
マーが成形面２，３内に又はこれら相互間に保持された状態でそれぞれのガラス転移温度
よりも低い温度に転移できるようにするステップを有する方法が提供される。次に、この
ようにして成形されたポリマーＰ（ａ），Ｐ（ｂ），Ｐ（ｘ）は、成形面から取り出され
る。
【０１３４】
　有利には、上側成形面から加えられる圧力は、成形されるべき材料又はポリマーがこれ
らのガラス転移温度よりも高い温度のままである間に加えられる。
　ポリマーの冷却及び／又はスキンニングは、ポリマーが成形面２，３の形状を取った後
に起こり始めるようになる。例えば、冷却及び／又はスキンニングは、上側成形面を当て
るステップの実施後であって上側成形面が成形圧力を及ぼした後に起こり始めるようにな
っている。
【０１３５】
　図７～図１２は、全体として、連続成形ツール（ＣＦＴ）又は移動ベルトフォーマ（Ｍ
ＢＦ）又は他の無端ベルトシステム１の下側成形面２上への押出しヘッド６からのポリマ
ーＰ（ａ），Ｐ（ｂ）（図示されていないＰ（ｘ））の連続流れを示している。説明を簡
単にするために、上側成形面３は、ポリマーＰ（ａ），Ｐ（ｂ），Ｐ（ｘ）の最も上側の
表面と接触状態では示されていない。しかしながら、理解されるように、上側成形面３を
下側成形面２の上方の高さ又はゲージングに関して制御することができ、そしてこのよう
な上側成形面を上側成形面３が成形中のポリマーの少なくとも最も上側の表面に当てられ
る位置まで下降させることができる。変形例として、下側成形面を上側成形面に向かって
近づけても良い。上側成形面と下側成形面との間の距離の調節は、成形プロセス中に実施
できる。
【０１３６】
　押出しヘッド６は、下側成形面２への成形されるべき材料（ポリマー）の流量を制御す
ることができる任意の押出しシステムに用いられる押出しヘッドであるのが良い。押出し
機に加えて、オプションとして、メルトポンプ（図示せず）を押出し機とインライン状態
で用いて成形面２への押出し物の流量の精度及び制御を支援し又は向上させるのが良い。
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メルトポンプは、ポリマーの押出し機出力を増大させると共にポリマー押出し物流量を制
御する上で特に有用な追加手段であるといえる。
【０１３７】
　図を参照して以下に本発明の実施形態について説明する。図６に示されているように、
材料の温度プロフィール（分布）は、本発明による材料の加工中、変化するようになって
いる。加工されるべき材料の温度は、Ｔpで示されている。参照しやすくするために、こ
のプロセスは又、セグメントに分割されている。ただし、制御システムの改良及びプロセ
スの実施中における検出の向上により、プロセスをこれよりも多くの制御可能なセグメン
トに分割することができる場合がある。図示のセグメントは、一般的な説明のためのもの
である。次に、本発明のプロセスについて詳細に説明する。
【０１３８】
　成形のために加工されるべき材料を選択する。この１種類又は複数種類の材料を各材料
のガラス転移温度（Ｔg）よりも高い温度まで昇温させる。この初期加熱ステージを第１
の温度ゾーン１（ＴＺ‐１）と称する。このステップにより、成形されるべき材料を「流
動可能な」状態にすることができる。このような状態は、材料をＣＦＴ又はＭＢＦ又は無
端ベルトシステム１上の下側成形面２（第２の温度ゾーン（ＴＺ‐２））上に制御可能に
流すことができるようにするのに必要である。理解されるべきこととして、成形されるべ
き材料を連続的に流すための成形面を提供する他の形態の採用が可能である。
【０１３９】
　第２の温度ゾーン（ＴＺ‐２）中、材料又は材料が存在している環境（即ち、周囲空気
又はダイ又は成形面）は、材料がこれらのＴgよりも高い温度のままであることができる
ようにするよう制御され、例えば、１つ又は複数のヒータを用いるのが良い。次に、上側
ダイ又は成形面３を成形されるべき材料に当てる。このようにすると、少なくともダイ又
は成形面と接触状態にある材料の表面を成形することができる。例えば２つの材料層（又
は、必要ならばこれよりも多い層）を成形面２上に流す場合、成形面の凹凸パターンは、
実質的に材料のうちの何割か又は全ての中に入り込むのが良い。このようにすると、多層
製品を成形することができる。このような一実施形態では、伝統的に非両立性の材料、例
えばＴＰＵとＰＣを一緒に成形することができる。
【０１４０】
　次に、材料を成形中の製品が無端ベルトシステム１に沿って運ばれているときに成形面
２，３の境界部内に保持する。温度ゾーン３（ＴＺ‐３）は、次の期間にわたり成形面２
，３内の材料を制御し、それにより、材料は、材料が成形面上に流されたときの温度から
温度が減少し始めることができる。
【０１４１】
　次の期間後、材料は、温度が一段と減少し、例えば、温度ゾーン４（ＴＺ‐４）の領域
内に位置するのが良い。ＴＺ‐４により、材料は、温度が更に一段と減少することができ
、このゾーンの終わりでは材料のガラス転移温度に達する。
【０１４２】
　次の温度ゾーン５、６及び７（ＴＺ‐５，ＴＺ‐６，ＴＺ‐７）がＴＺ‐１～ＴＺ‐４
から見て下流側に更に設けられている。これら後者のゾーンにより、材料は、ガラス転移
温度よりも低い温度から周囲温度（Ｔa）に（例えば、約９０℃から約２０℃に）温度が
減少することができる。これら温度ゾーンは、先のゾーンと同様、成形された材料をダイ
又は成形表面内に保持した状態で冷えることができるよう温度制御される。このように、
成形製品を成形面から取り出し可能に材料のガラス転移温度よりも低い温度まで且つ周囲
温度（Ｔa）に近い温度まで温度を減少させる。
【０１４３】
　材料が各温度ゾーン内に保持されるのに必要な期間は、コンベヤシステム１が作動する
線速度（ＬＳ‐１）（例えば、メートル／分）で決まる。この期間は又、材料の冷却速度
の制御能力で決まる。材料が各温度ゾーン内に保持される期間は、コンベヤの線速度ＬＳ
‐１又は冷却ゾーンＣＺの長さを調節することにより（即ち、長くし又は短くすることに
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より）制御可能である。これらの期間は又、成形中のポリマーの冷却速度で決まるであろ
う。
【０１４４】
　一般的に言って、加熱ゾーン（ＴＺ‐１，ＴＺ‐２）は、できるだけ迅速に稼働される
ことが考えられ、これにより、材料をこれらのＴgよりも高い温度に保つためのエネルギ
ーが必要とされる期間が最小限に抑えられる。これら温度ゾーンセグメントを迅速に作動
させることは、プロセス及び材料又はポリマーの最も溶融した状態での送り出しに関する
全（エネルギー）加熱要件を最小限にするのを助ける。
【０１４５】
　一般的に言って、冷却ゾーン（ＴＺ‐３，ＴＺ‐４，ＴＺ‐５，ＴＺ‐６，ＴＺ‐７）
は、材料をこれらのガラス転移温度よりも低い温度に、更に周囲温度Ｔaまで冷却するの
に必要な時間に応じて稼働されることが考えられる。成形された材料から十分な熱エネル
ギーを除去してダイからの材料の取り出し時に、材料が成形形状を保持するようにしなけ
ればならない。十分な熱エネルギーを材料から除去する前にダイ又は成形面からの取り出
しを行うと、その結果として、材料内部からの熱エネルギーが引き続き、このようにして
形成された材料及び製品の外面に移動する場合がある。
【０１４６】
　成形された製品が十分に冷却されない場合、製品のコアは、成形された製品の表面に伝
わるのに十分な熱エネルギーを保持する場合があり、その結果、表面構造体及び製品それ
自体の不安定化が生じる。このような場合、このようにして成形された製品の構造的安定
性は、材料が固相になる上でまだ十分な熱エネルギーを失っていないので失われる場合が
ある。互いに異なる種類の材料（ポリマー）が互いに異なる速度で冷却する場合があるの
で、ＣＺをそれに応じて調節するのが良い。
【０１４７】
　成形されるべき多層製品の場合、用いられるべき材料（例えばポリマー）をこれらのガ
ラス転移温度よりも高い温度まで昇温させる。次に、ポリマーのうちの最初のものＰ（ａ
）を押出し物として押出しヘッド６から無端ベルトシステム１の下側成形面２上に連続的
に流す。同様に、ポリマーのうちの第２のものＰ（ｂ）を第１のポリマーＰ（ａ）の上面
３ａ上に押出し物として連続的に流す。このようにすると、ポリマーの二重層が成形面２
上に塗被される。これは、計画している最初の２つの温度ゾーンセグメントである。次に
、ポリマーＰ（ａ），Ｐ（ｂ）を依然としてこれらのそれぞれのガラス転移温度よりも高
い温度のままの状態で運んで上側成形面３が上側ポリマー層Ｐ（ｂ）の少なくとも最も上
側の表面３ｂに当てられるようにする。上側成形面３をポリマーに当てて圧力をこれに加
え、すると、上側成形面の成形が実施される。上側成形面３からの圧力は、ポリマーを成
形面２，３相互間の定位置に保持するのを助ける。また、このような圧力を用いると、ポ
リマーを使用中のダイ又は成形面の表面凹凸特徴部中に押し込むことができる。図６に示
されているように圧力をダイ圧力箇所（ＤP）のところで加える。このような表面凹凸特
徴部は、ポリマー上に成形されるべきパターン又は３次元形状を定める。成形可能な製品
の例について以下に説明する。
【０１４８】
　“Ｄ”は、下側成形面２上に流される材料の幅である。材料の幅は、押出しヘッド６に
より調節可能である。幅は、このように成形されている製品の用途で決まる場合がある。
押出し物を成形製品に加工する上での制限要因は、成形面２の直径“Ｃ”で決まるであろ
う。押出しヘッド６からの流量の制御も又、問題になる場合があり、即ち、メルトポンプ
（図示せず）の導入によって流量制御を支援するのが良い。しかしながら、明らかなこと
として、幅の広いベルトシステム及び成形面を提供することにより、成形されるべき製品
の幅を大きくすることができるであろう。
【０１４９】
　“Ａ”は、成形面２に対する押出しヘッド６からの材料の流れ角度である。押出しヘッ
ドの角度は、ダイ表面上への押出し物の角度を変えるよう変更可能である。このような押
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出し物の角度を変更することは、押出し物がダイ表面に出会う流れ方向の変更を助ける。
このようにダイ角度を変更することができることは、押出し物及びプロセス速度の僅かな
変更に対応することができると共に第２の押出しヘッドからのメルトフローインデックス
が異なる別の押出し物と連続して用いられる場合のポリマーのメルトフローインデックス
の変更に対応することができる。押出し物がダイ表面と出会う理想的な角度は、約６０°
～約９０°である。この角度範囲は、押出し物とダイ表面との間の空気取り込みを最小限
に抑えるのを保証するのに役立つ。また、種々のダイ角度は、ポリマーをダイ表面上に流
すのに利用される領域内における数個のダイの位置合わせに対応するよう使用できる。
【０１５０】
　“Ｒ”は、材料が下側成形面上に流れる際の変向（方向転換）角度である。最小限の変
向アールは、押出し物とダイ表面との間の最小限の空気取り込みを保証する。このアール
は、このようなアール周りのポリマーの流れが応力をポリマー中に加えるようにするほど
きつすぎてはならない。一般的に言って、このアールは、押出し物の厚さの約２倍以上且
つ押出し物の厚さの約１０倍以下であるべきである。
【０１５１】
　“Ｂ”は、押出しヘッド６のリップから下側成形面の表面までの垂直高さである。ダイ
頂面の高さ、ダイ底面の高さ及びダイ底面に対する押出しダイの高さを調節できることに
よりダイ表面上への自由落下押出し物の長さを制御することができる。この押出し物長さ
の制御は、ポリマーの重量からの押出し物の延伸／伸びを最小限に抑える。延伸／伸びは
、応力をポリマー中に生じさせ、押出し物の厚さを変化させ、しかも押出し物の幅を減少
させる。
【０１５２】
　“ＥＳ‐１”は、押出し物が押出しヘッド６から流し出される際の線速度である。押出
し物の線速度をプロセス／ベルトの線速度にできるだけ近づけて一致させるべきである。
押出し物の線速度がプロセス／ベルトの線速度よりも低い場合、押出し物は、細長くなり
又は引き伸ばされてポリマーに応力が加えられ、押出し物の厚さが減少し、しかも押出し
物の幅が減少し、これは、押出し物の「ネックイン（neck in）」と一般に呼ばれている
。
【０１５３】
　押出し物の線速度がプロセス／ベルトの線速度ＬＳ‐１よりも高い場合、押出し物は、
集まり、貯まり、ひだ状になり又はリップルし、それによりダイ表面上における押出し物
の厚さが不均一になる。例えば、“ＬＳ‐１”は、無端ベルトシステム１が走行する際の
線速度又は線速度（メートル／分）である。
【０１５４】
　ポリマーの僅かなプロセス方向引き伸ばし又は配向現象が最終製品にとって有益である
用途に関し、押出し物線速度と比較した場合のプロセス速度の僅かな増大により、ポリマ
ーの配向現象が引き起こされる。このポリマー配向現象は、流れ方向における光学的性質
又は強度の増大を製造中の製品に与えるために利用可能である。
【０１５５】
　押出しヘッド６ＥＳ‐１からの押出し物の線速度（例えば、メートル／分）を有利には
、無端ベルトシステムの線速度ＬＳ‐１（例えば、メートル／分）に一致させる。このよ
うに、下側成形面２上に連続的に流されている材料は、成形面上に引き伸ばされず又は動
かされず又は引っ張られない（これは、ＥＳ‐１，ＬＳ‐２相互間の線速度の相対的差で
ある）。これは、押出し物に加わる応力又は張力を最小限に抑えるのを容易にすることが
できる。それどころか、押出し物は、成形面上に塗被され又は流され、この成形面は、押
出し物を受け入れ、押出し物は、モールドの表面凹凸特徴部中に流れる。
【０１５６】
　図７～図１２（幾つかの図は、上側成形面３を示していない）を参照すると、無端ベル
トシステム１が示されており、この無端ベルトシステムは、下側成形面２及び上側成形面
３を有し、上側成形面を計測し、そして押出しシステム（細部は示されていない）の押出
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しヘッド６から連続的に流されているポリマーＰ（ａ）の上面３ａに接触させることがで
きる。ポリマーＰ（ａ）は、そのＴgよりも高い温度状態で提供され、従って、ポリマー
を下側成形面に流すと、ポリマーは、モールドの形状を取るようになる。プロセスを上述
した種々の温度ゾーンに従って実施するのが良い。
【０１５７】
　図１１及び図１２は、２種類以上の押出し物が加工されるべき本発明の別の実施形態を
示している。図１１は、押出し材料の二重層Ｐ（ａ），Ｐ（ｂ）を下側成形面上に流す単
一の押出しヘッド６を示している。図１２は、押出し材料の層Ｐ（ａ），Ｐ（ｂ）を下側
成形面２上に流す１対の押出しヘッド６を示している。理解されるように、３つ以上の押
出しヘッドを押出し物の追加の層状化のために使用することができる。変形例として、多
数の材料層を押し出すことが可能な押出しヘッドを用いても良い。
【０１５８】
　図１３ａ、図１４ａ、図１５ａは、種々の成形面のＳＥＭ画像を示す図であり、対応の
図１３ｂ、図１４ｂ、図１５ｂは、これらのそれぞれの成形製品（即ち、成形ＰＳ）を示
している。
【０１５９】
　図１６は、成形面の一部の断面図である。例えば、この成形面は、下側成形面２である
のが良い。提供されている寸法は、孔“ａ”（例えば、直径約５マイクロメートルである
）、孔の厚さｔ1（例えば、約２マイクロメートル）、孔から頂面の頂部までの高さｔ2（
例えば、約５０マイクロメートル）、内側半径Ｒ１（例えば、約１５マイクロメートル）
及び外側半径Ｒ２（例えば、約２５マイクロメートル）及び開口部“ｂ”（例えば、約５
０マイクロメートル）である。
【０１６０】
　図１７～図２１は、材料（例えばポリマー）が表面２Iか表面２IIかのいずれかからモ
ールド上に流される場合に用いられる図１６のモールドを示している。
【０１６１】
　図１７は、低応力材料（例えば、液体ポリマー）を表面２Iから小径孔（ａ）を通って
流してモールドキャビティを充填することができることを実証しているＳＥＭ画像を示す
図である。この図は、本発明が小径孔を通って多量の材料を通して低応力多量のポリマー
の流れが高いアスペクト比の製品を形成することができることを例示している。モールド
のキャビティ内の材料の量は、孔（ａ）及び厚さｔ1で境界付けられた容積内に保持可能
な材料の量の５０倍以上である。
【０１６２】
　図１８は、図示の孔（ａ）を備えた成形面２IIのＳＥＭ画像を示す図である。図１９は
、低応力材料（例えば、液体ポリマー）を成形面２Iからモールドの他方の表面２IIに流
すことができることを実証しているＳＥＭ画像を示す図である。画像は、下側の表面２II

のところで孔（ａ）から流れ出ているポリマーＰ（ａ）を示している。
【０１６３】
　図２０は、成形面からいったん取り出された成形ポリマーのＳＥＭ画像の図である。成
形ポリマー製品は、ポリマーを成形面２Iに塗布した結果であって、孔（ａ）を越えて外
方に延びるよう流され又は押し込められたものではない。図２１は、再現性を実証してい
る図２０の製品のうちの多くのもののＳＥＭ画像を示す図である。
【０１６４】
　別の実施形態では、本発明の方法は、ナノスケール又は近ナノスケールの表面細部を備
えた１つ又は複数の表面を有するようアイテムを成形する方法から成り、この方法は、成
形可能な材料を流動又は塗被又は被着により表面上に塗布するステップと、材料を成形す
るステップとを有する。
【０１６５】
　別の実施形態では、本発明の方法は、ナノサイズの表面凹凸を含む少なくとも１つの表
面を備えたアイテムを成形する方法から成り、この方法は、第１の定盤の表面上に成形さ
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れるべき前駆物質の１つ又は複数の層を被着させるステップを有し、この前駆物質は、被
着時に、溶融状態又はオプションとして近溶融状態又は少なくとも非剛性状態であり、第
２の定盤を第１の定盤に向かって変位させることにより圧力を前駆物質層に加えて前駆物
質を少なくとも部分的に成形するステップを有し、一方又は両方の定盤は、前駆物質に少
なくとも部分的にそのネガを与えるようナノサイズの表面凹凸を含む表面を支持し又は有
する。
【０１６６】
　表面は、両面型ダイ又はインプリンタダイ又は打抜きモールドの一方の側又は成形面を
受け入れる基板又は定盤であるのが良い。成形面は、連続成形ツール（ＣＦＴ）、移動ベ
ルトフォーマ（ＭＢＦ）、インプリンタ又はダイ若しくは適当なインプリンタモールドの
一部であるのが良い。ダイ又は成形面は、望ましくは、比較的高い熱伝達量又は高い熱伝
導率を有する材料である。
【０１６７】
　成形面は、定盤又は例えば移動ベルトフォーマ、スタンプインプリンタ又はダイインプ
リンタ又は打抜きモールド連続成形ツールのうちの任意のものの一部であるのが良いこと
が認識される。
【０１６８】
　図７～図１２に示されているように、本発明の方法の実施にあたり無端ベルトシステム
を用いるのが良い。ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００３０１及びＰＣＴ／ＮＺ２００６／０
００３００に記載された方法及び装置に関する説明をこれら国際出願を参照により引用す
ることにより本明細書の一部とする。これら国際出願に記載された方法及び装置は、特に
本発明の実施に適しているといえる。
【０１６９】
　有利には、材料（ポリマー）が弛緩又は応力減少状態にあるときにこのような材料がダ
イ表面を横切って動くことを必要としない仕方で材料を塗布することにより、所望の製品
を成形するための成形圧力を減少させることができる。必要な成形圧力を減少させ又はほ
ぼゼロにすることにより、材料の変形応力を最小限に抑えるのに役立つと共に溶融状態又
は液相から固体状態又は固相への変化の際に材料の収縮応力を一段と減少させることがで
きる。例えば、本発明により、成形プロセス中、成形される製品に与えられる場合のある
表面応力又は張力が最小限に抑えられた成形製品の形成が可能である。これら利点は、成
形作業に先立って流動可能な状態又は条件に変更することができる材料の使用によって達
成できるように思われる。また、材料は、ダイ表面を横切って流れる必要はない。
【０１７０】
　例えば、材料は、成形ツールの表面への塗布時に実質的に溶融状態であるのが良く又は
これに近い状態であるのが良い。変形例として、材料は、成形ツールの表面への連続的塗
布の際に実質的に液相であっても良く又はこれに近い状態であって良い。このような特徴
により、材料の流動可能な状態での塗布が可能である。
【０１７１】
　一実施形態では、材料は、表面を実質的に覆う材料のシートが達成されるまで流れるこ
とによって表面に塗布されるのが良い。
【０１７２】
　具体的に説明すると、材料の熱伝達特性は、少なくとも一部が、次の成形作業のために
表面に塗布可能な材料の最大深さに寄与することができる。しかしながら、予想されるよ
うに、温度制御可能な冷却ゾーンを設けることにより、材料（ポリマー）が成形面からの
材料の取り出しに先立って、その（又はこれらの）ガラス転移温度よりも低い温度まで減
少することができるようにする際に高い熱容量の材料又は深さ若しくは厚さが増大した製
品の製造が可能である。
【０１７３】
　特定の実施形態では、材料を約５０ｍｍ、４０ｍｍ、３０ｍｍ、２０ｍｍ、１０ｍｍ以
下又は約５ｍｍ以下又は約３ｍｍ以下又は約２ｍｍ以下の厚さまで表面に塗布するのが良
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い。さらに別の実施形態では、材料は、０．１ｍｍ～約３ｍｍの深さまで塗布される。変
形例として、深さは、約４ｍｍ又は３ｍｍ又は２ｍｍ又は１ｍｍである。
【０１７４】
　別の実施形態では、表面に塗布される材料の厚さは、少なくとも約０．５マイクロメー
トル、１マイクロメートル、２マイクロメートル、３マイクロメートル、４マイクロメー
トル５マイクロメートル、６マイクロメートル、７マイクロメートル、８マイクロメート
ル、９マイクロメートル、１０マイクロメートル、１５マイクロメートル、２０マイクロ
メートル、２５マイクロメートル、３０マイクロメートル、３５マイクロメートル、４０
マイクロメートル、４５マイクロメートル、５０マイクロメートル、５５マイクロメート
ル又は約５６マイクロメートル、６０マイクロメートル、６５マイクロメートル、７０マ
イクロメートル、７５マイクロメートル、８０マイクロメートル、８５マイクロメートル
、９０マイクロメートル、９５マイクロメートル、１００マイクロメートル、１０５マイ
クロメートル、１１０マイクロメートル、１１５マイクロメートル、１２０マイクロメー
トル、１２５マイクロメートル、１３０マイクロメートル、１３５マイクロメートル、１
４０マイクロメートル、１４５マイクロメートル、１５０マイクロメートル、１５５マイ
クロメートル、１６０マイクロメートル、１６５マイクロメートル、１７０マイクロメー
トル、１７５マイクロメートル、１８０マイクロメートル、１８５マイクロメートル、１
９０マイクロメートル、１９５マイクロメートル、２００マイクロメートル、２２０マイ
クロメートル、２４０マイクロメートル、２６０マイクロメートル、２８０マイクロメー
トル、２９０マイクロメートル、３００マイクロメートル、３５０マイクロメートル、４
００マイクロメートル、４５０マイクロメートル、５００マイクロメートル、５５０マイ
クロメートル、６００マイクロメートル、６５０マイクロメートル、７００マイクロメー
トル、７５０マイクロメートル、８００マイクロメートル、８５０マイクロメートル、９
００マイクロメートル、９５０マイクロメートル、１，０００マイクロメートル、１，０
５０マイクロメートル、１，１００マイクロメートル、１，１５０マイクロメートル、１
，２００マイクロメートル、１，２５０マイクロメートル、１，３００マイクロメートル
、１，３５０マイクロメートル、１，４００マイクロメートル、１，４５０マイクロメー
トル、１，５００マイクロメートル、１，５５０マイクロメートル、１，６００マイクロ
メートル、１，６５０マイクロメートル、１，７００マイクロメートル、１，７５０マイ
クロメートル、１，８００マイクロメートル、１，８５０マイクロメートル、１，９００
マイクロメートル、１，９５０マイクロメートル、２，０００マイクロメートル、２，０
５０マイクロメートル、２，１００マイクロメートル、２，１５０マイクロメートル、２
，２００マイクロメートル、２，２５０マイクロメートル、２，３００マイクロメートル
、２，３５０マイクロメートル、２，４００マイクロメートル、２，４５０マイクロメー
トル、２，５００マイクロメートル、２，５５０マイクロメートル、２，６００マイクロ
メートル、２，６５０マイクロメートル、２，７００マイクロメートル、２，７５０マイ
クロメートル、２，８００マイクロメートル、２，８５０マイクロメートル、２，９００
マイクロメートル、２，９５０マイクロメートル、３，０００マイクロメートル、３，５
００マイクロメートル、３，５５０マイクロメートル、３，６００マイクロメートル、３
，６５０マイクロメートル、３，７００マイクロメートル、３，７５０マイクロメートル
、３，８００マイクロメートル、３，８５０マイクロメートル、３，９００マイクロメー
トル、４，０００マイクロメートル、４，０５０マイクロメートル、４，１００マイクロ
メートル、４，１５０マイクロメートル、４，２００マイクロメートル、４，２５０マイ
クロメートル、４，３００マイクロメートル、４，３５０マイクロメートル、４，４００
マイクロメートル、４，４５０マイクロメートル、４，５００マイクロメートル、４，５
５０マイクロメートル、４，６００マイクロメートル、４，６５０マイクロメートル、４
，７００マイクロメートル、４，７５０マイクロメートル、４，８００マイクロメートル
、４，８５０マイクロメートル、４，９００マイクロメートル、４，９５０マイクロメー
トル、５，０００マイクロメートル又は０．１ミリメートル～約３ミリメートルの深さで
あるのが良く、有用な範囲は、これらの値のうちの任意の値相互間（例えば、約０．５ミ
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リメートル～約３ミリメートル、約０．２ミリメートル～約２ミリメートル）から選択さ
れるのが良い。
【０１７５】
　材料がポリスチレンである別の実施形態では、その温度は、表面との接触時に約２３０
℃であるように制御されるのが良く、材料がポリカーボネートである場合、その温度は、
表面との接触時に約３００℃であるように制御されるのが良い。温度制御は、熱調節シス
テムの任意の仕方により、例えば、電気ヒータ又は熱交換器により達成できる。表面又は
成形ツールの一部の温度制御も又、実施できる。この場合も又、これらは、温度調節装置
、例えば電気加熱システム、赤外線（ＩＲ）又は他の熱交換器、例えば成形ツールの定盤
を加熱するための高温油システムによって実施されるのが良い。理解されるように、表面
を加熱し又は表面温度を維持する他の方法が想定され、これは、本明細書にのみ説明した
システムには限定されない。
【０１７６】
　また、例えば材料の物理的性質を特定の温度におけるその粘度又は展性に応じて例えば
溶融又は半溶融状態又は液相に合わせて制御するために、材料は、所定の材料の流動学的
性質に従って温度制御されるのが良いことが想定される。
【０１７７】
　成形作業の実施前に材料の温度を制御する際、エネルギーを材料に入力して材料の半溶
融若しくは溶融状態又は液相を形成したり材料が集まって貯まることができるようにする
ことは、表面上への材料の次の流動又は布設を助けることができることが考えられる。材
料を半溶融状態、溶融状態又は液相で表面に供給するのが良い。変形例として、材料をシ
ート形態で表面に供給しても良い。
【０１７８】
　適当な材料は、次のもの、即ち、溶融状態の成形可能な材料、熱成形可能な温度で塗布
される熱成形可能材料、表面又は１つ若しくは複数の成形ツールにより成形可能な状態ま
で加熱される熱成形可能な材料、表面又は１つ若しくは複数の成形ツール等により冷却さ
れる熱成形可能な材料又は溶融状態の成形可能な材料、表面又は１つ若しくは複数の成形
ツールにより熱硬化される熱成形可能な材料及び異なる性質の１種類又は２種類以上の材
料と組み合わせられた上述の材料のうちの任意のもののうちの１つ又は２つ以上を含むの
が良い。
【０１７９】
　本発明を任意の流動性材料又は塑性変形可能な材料、例えばポリマー及び金属に利用で
きることが想定される。しかしながら、最も好ましい材料としては、熱硬化性ポリマー又
は熱可塑性ポリマーが挙げられる。ポリマー材料としては、炭化水素系物質が挙げられ、
このような炭化水素系物質としては、最近の技術傾向が示唆するように広汎に利用できる
植物由来の油性物質で構成されたポリマー材料が挙げられる。
【０１８０】
　また、本発明の方法に使用できる材料は、これらの熱成形可能な温度で表面に塗布可能
であるべきであることはいうまでもない。
【０１８１】
　特に適当で且つ想定される材料としては、以下のもの、即ち、ポリマー複合材、ポリカ
ーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、汎用ポリスチレン（ＧＰＰＳ）又はポリメ
チルメタクリレート（ＰＭＭＡ）が挙げられるが、これらには限定されない。光媒体用途
に特に適しているといえる材料としては、以下のもの、即ち、紫外線安定化熱可塑性ポリ
ウレタン、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート又は汎用ポリスチレンが挙げら
れるが、これらには限定されない。
【０１８２】
　他の適当な材料としては、導電性ポリマー及び創傷被覆材に適したポリマーが挙げられ
る。
【０１８３】
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　金属又は金属合金の例としては、純金属、金属酸化物（例えば、成形プロセスの一部又
は成形作業に続くプロセスステップとして焼結可能なセラミックス）、非結晶性セラミッ
クス、結晶セラミックス、非酸化物セラミックス、例えば炭化物、ホウ化物、窒化物又は
珪化物又はこれらの複合材例えば、粒子強化セラミックス、又は酸化物セラミックスと非
酸化物セラミックスの組み合わせが挙げられる。例えば、金属酸化物、例えばアルミナ又
はジルコニアの酸化物が用いられ、セラミックスが形成される場合、成形ステップは、未
加工物体又は未加工物体及び焼結アイテムの中間生成物の成形を可能にする。
【０１８４】
　オプションとしてスラリーの形態で又は次の成形作業のための支持基板上に提供される
セラミックスの幾つかの別の例としては、チタン化バリウム（多くの場合、チタン化スト
ロンチウムと混合される）、ビスマスストロンチウムカルシウム銅酸化物、窒化ホウ素、
フェライト（Ｆｅ3Ｏ4）、ジルコン酸チタン酸鉛、マグネシウムジボライド（Magnesium 
diboride：ＭｇＢ2）、シアロン／シリコンアルミニウムオキシニトリド、炭化珪素（Ｓ
ｉＣ）、窒化珪素（Ｓｉ3Ｎ4）、ステアタイト（珪酸マグネシウム）、炭化チタン、酸化
ウラニウム（ＵＯ2）、イットリウムバリウム銅酸化物（ＹＢａ2Ｃｕ3Ｏ7-x）、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）、二酸化ジルコニウム（ジルコニア）が挙げられる。
【０１８５】
　適当な材料は、望ましくは、流動性要件を満たすのが良い。
【０１８６】
　当業者であれば、本発明において有効に働く本明細書には記載されていない多くの他の
材料が存在することを理解し、本発明は、本明細書において説明した例示の実施例には限
定されないことは理解されるべきである。
【０１８７】
　有利には、材料は、表面への塗布前に温度制御されるのが良い。変形例として、材料は
、表面への塗布時に温度制御されても良い。さらに別の変形例として、材料は、表面への
塗布前に温度制御されると共に表面への塗布時に温度制御されても良い。温度制御は、材
料の温度を測定し、これをヒータにより調節することによって達成できる。ヒータは、直
接加熱装置、例えば、材料中に浸漬される電気ヒータであっても良く、或いは、間接加熱
装置、例えば熱を熱伝達流体から熱導電性表面を介して加熱されるべき材料に与える熱交
換器（例えば、多管式熱交換器）であっても良い。
【０１８８】
　また、成形装置（ＭＢＦ、ＣＦＴ、ダイ又はモールド）の１つ又は複数の表面を加熱し
て形成されるべき又は形成中の材料の温度を維持しても良いことは理解されるべきである
。加熱型表面を設けることは、材料の冷却若しくはアニーリング又は材料の凍結速度を成
形作業前、成形作業中又は成形作業後に加工中の材料のＴgよりも低い温度に減速するこ
とも又助けることができる。
【０１８９】
　成形作業に用いられる表面は、成形されるべき所定の製品に従って構成され又は配置さ
れるのが良い。インプリント又は成形面を所望に応じて配置され又は構成された金属被覆
ナノチューブで形成するのが良い。ただし、他の表面成形方法も又、本発明において利用
できることが想定される。
【０１９０】
　例えば上述のＰＣＴ出願において記載されている連続成形ツール（ＣＦＴ）を用いた場
合の利点としては、成形ゾーン内の圧力を変化させることができること、成形ブロックの
側方及び軸方向膨張が可能であること、成形面を備えた底部軌道／定盤の昇降が可能であ
ること、作業相互間及び軌道の長さ全体にわたる機械のクランプ圧力を変化させることが
できるということのうちの１つ又は２つ以上が挙げられる。
【０１９１】
　ＣＦＴ製造技術は、平らなシートや多くの他の異形材、例えば３次元形状物、非対称形
状物、軸方向非対称形状物（例えば管）又は光学レンズ（これらには限定されない）に利
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用できる。この製造技術の別の利点としては、中間プロセス、例えば射出成形部分挿入、
長さ及び速度が様々であって良い頂部及び底部軌道／定盤、に対応できること、つがい関
係をなすダイの高精度位置合わせが可能であること、各成形ブロック及び／又は各軌道の
温度を別々に制御できること、高い成形速度、成形ブロックのフェース又は縁部ではなく
側板が荷重を支える成形ブロックが溶融及び半溶融材料に関して働くことができるという
こと、液体又は半液状材料が底部ダイまで流れ、次に圧力成形されること、極めて小さな
形状物をインプリントすることができるということ、幅又は深さが少なくとも１ナノメー
トルまで小さいこと若しくはこれ以下であること、及び非直線状圧力成形ゾーンを有する
ことができるということが挙げられる。
【０１９２】
　本発明は、有利には、ポリマーがダイ又は成形面を横切って流れることがないようにポ
リマーをダイ又は成形面上に連続的に流し又は布設することができる。ダイ又は成形面は
、ポリマーの温度状態に又はこれに近い温度状態になるよう制御され又は可能であり、ポ
リマーは、その液相状態にあり又はこれに近い状態にある。ポリマーがダイ又は成形面を
横切って動くことがないようにポリマーをダイ又は成形面上に塗布して保持し、ポリマー
は、重力により動くが、任意他の力によっては動かない。ポリマーは、圧縮成形力が加え
られるまで十分な時間にわたってモールド内にその形状のまま保持される。
【０１９３】
　望ましくは、本発明の方法は、成形中、最小限の応力をポリマー中に与えるよう設計さ
れている。これは、ポリマーが弛緩状態で、好ましくは可能な限り最も弛緩した状態（即
ち、液相）でダイ又は成形面に塗布され、ポリマーの移動量は、ダイ又は成形面の表面パ
ターンのみを受け取ることによって最小限に抑えられるからである。これは、ポリマーが
できるだけその液相に近い状態にあり、ダイ又は成形面を直接的に完全に横切ると共に／
或いはこの上に布設されるので可能である。表面パターン又は凹凸を形成するためにポリ
マーをモールド表面を相当横切って動かす必要はない。これとは異なり、上側ダイ又は成
形面は、ポリマーを成形面の表面パターン又は凹凸の形態に仕上げ又は動かすために例え
ば１～３ｋｇ／ｃｍ2の最小圧力を及ぼすために用いられる。
【０１９４】
　本発明によれば、成形ゾーンは、加熱ゾーンの延長部であるのが良い。冷却ゾーンは、
成形されるべきポリマーがいったん「付形」された場合にのみ開始され又は始まる。既存
の方法と比較して、通常、冷却ゾーンは、押出し機又は射出成形装置を出た際に又はその
直後に設けられる。
【０１９５】
　さらに、本発明の方法は、液相ポリマーを十分な速度で圧縮ゾーン中に移送し、ポリマ
ーをダイ又は成形面を横切ってそれほど動かさないで、ポリマーをその液相状態に維持す
ることができる。
【０１９６】
　この方法では、成形中、ポリマーに加える応力がほぼゼロであり、これは、ポリマーが
液相状態にあって完全に弛緩されていること、ダイ表面を横切るポリマーの移動が最小限
であること、成形中におけるダイ表面の温度がポリマー温度に近いこと、冷却サイクルが
制御されること、成形方法が高速であることに起因している。ポリマーは、射出されず、
又は、大きな力／高い圧力を受けず或いは多くの流路を辿らない。
【０１９７】
　また、小さな応力の結果として、ダイをポリマー温度が依然として比較的高い状態であ
る時にポリマーから取り出すことができ、最終冷却中、この形状は、変形しない。これは
、成形された材料中の内部応力がほとんどなく又はゼロであるからである。
【０１９８】
　製造された製品は、使用の際、内部ポリマー応力、例えば剪断応力又は成形応力の弛緩
を引き起こす特に高い温度及び／又は化学薬品への曝露の際に変形の恐れが小さく、もし
そうしなければ、成形されたパターンの変形が引き起こされる。
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【０１９９】
　また、小さな応力の結果として、高い圧縮性により柔軟性材料（例えば、ＴＰＵ）をミ
クロン及びサブミクロンサイズのパターンに形成することができ、これらパターンは、パ
ターンを形成するために圧縮力を及ぼすモールドからの離型の際に通常失われる。
【０２００】
　高い熱伝導性のダイ又は成形面を用いることにより、ダイ表面は、ダイ表面への塗布の
際にポリマーの温度を迅速に吸収し又はこのダイ表面をこのようなポリマー温度に合わせ
て増大させ又は調節することができる。同様に、このようなダイ又は成形面は、次に、ダ
イ表面との接触時にポリマーを冷却し又はこのようなポリマーから熱を奪うことができる
。
【０２０１】
　有利には、本発明により、ポリマーを約１ｋｇ／ｃｍ2～約３ｋｇ／ｃｍ2の圧力で成形
することができる。ただし、この方法では上述の他の圧力又は圧力範囲を用いることがで
きる。この特定の成形圧力は、公知の成形技術と比較して比較的極めて低い。射出成形用
の公知の技術の圧力は、約２６０～３５０ｋｇ／ｃｍ2である場合が多い。
【０２０２】
　上述したように、多種類のポリマーを成形面上に成形することができるということは、
本発明により可能であり、例えば、２種類のポリマーを同時に成形することが可能である
。製品の両面に同時にパターン付けし、パターン又は成形面を位置合わせして所望の成形
製品を製造することができる。押出し物の各側でのパターンの位置合わせは、ダイ表面の
位置合わせにより達成される。位置合わせは、テーパ締まり嵌め又は他の通常の物理的方
法による表面の物理的位置合わせかダイ表面の配置場所及びダイ表面からのセンサフィー
ドバックを介するダイ表面の相対速度の制御かのいずれかにより制御可能である。
【０２０３】
　製品の各側のパターンの位置合わせは、製品の光学的性質を高めるために利用可能であ
る。
【０２０４】
　互いに異なる種類のポリマーの多層積層物を形成し、互いに異なるパターンを互いに異
なるポリマーであるのが良い２つの外面に施すことができ、一方のポリマー／表面は、Ｕ
Ｖ安定性を提供すると共に非反射性表面をもたらすパターンを有することができ、他方の
ポリマー／表面は、活性被膜、例えば電極を被着させるための表面積が増大した状態で耐
化学性（耐薬品性）をもたらすことができる。
【０２０５】
　アスペクト比が大きな製品の成形は、成形面を横切る最小限のポリマー流量及びポリマ
ーがポリマーの自重により、必要とする最小限の追加の圧縮成形力（小さな応力）の状態
で、ダイ又は成形面の表面パターン又は凹凸キャビティ中に流れ込むことができるように
するダイ表面温度により可能である。約１０：１又はそれどころか最高２０：１又はそれ
どころかこれよりも大きなアスペクト比が達成可能である（表面凹凸の深さ：幅）。
【０２０６】
　本発明は、加熱ゾーンＨＺ及び冷却ゾーンＣＺの時間及び長さ、押出し機のダイ高さ、
押出しダイヘッドからの押出しメルトの速度とダイ又は成形面上に塗布される押出しメル
トの半径を変化させるための速度制御を含む押出し厚さ及び幅を制御するためのプロセス
速度の速度差を変化させることができるプロセスを提供する。
【０２０７】
　約３６メートル／分（又はこれ以上）の線速度での成形製品の生産速度が達成可能であ
る。例えばナノスケールサイズの凹凸成形構造体の既存の成形技術は、これよりも著しく
速度が低い（ナノスケールサイズの成形構造体の生産速度に関する既存の技術は、１日に
つき約数平方メートルあたりである）。これとは対照的に、本発明は、１日につき約２５
，０００ｍ2の生産速度を容易に達成することができる（毎日２３時間稼働する５００ｍ
ｍ幅の成形面上での３６ｍ／分の作動条件で）。
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【０２０８】
　別の利点としては、押出し速度ＥＳ‐１とダイ表面速度又は線速度ＬＳ‐２の速度差に
より引き抜き速度をスピードアップすることによって押出し物の厚さを減少させると共に
／或いは調節すると共に／或いは制御することができるということが挙げられる。
【０２０９】
　プロセス速度、加熱時間の長さ、冷却時間の長さ、プロセスの幅及び生産性に関する変
数を調節することは、全て、所望の製品を製造するために実施可能である。本発明の作動
における制限要因は、現在のところ、押出し速度であると理解される。ただし、これは、
押出し物流量の制御を向上させると増大させることができる。
【０２１０】
　本発明は、約１ＭＦＩから約５０（又はこれ以上）のＭＦＩ（ＭＦＩは、「メルトフロ
ーインデックス」である）の広汎なポリマー粘度の加工を含む押出し可能な材料、例えば
ポリマーに適していると考えられる。代表的には、これは、他の技術、例えば押出し、ホ
ットエンボシング又は射出成形では可能ではない。
【０２１１】
　約１０（又はこれ以下の）マイクロメートルから約２０ｍｍまでの押出し厚さが想定さ
れ、このような押出し厚さは、例えば幅が約３ｍの広い表面領域のパターン付けを含み、
又、押出し厚さは、必要な用途又は機械又は用いられるべき成形面に応じてこれよりも幅
が広くても良い。加うるに、本発明は、押出し物の全幅Ｄにわたるパターン付けが可能で
あるよう実施可能である。これと比較すると、他の生産プロセスは、通常、幅が約８イン
チ（２０．３２ｃｍ）までの製品（例えば、ウェーハ）を製造することができるにすぎな
い。　連続方法（プロセス中へのポリマーの連続供給と連続製品生産の両方）は、このよ
うに成形中のパターン又は表面凹凸パターンにつなぎ目がない状態で可能である。
【０２１２】
　さらに、成形中の製品は、まさしく平坦な又は平らな表面ではなく、３次元表面周りに
成形面によって成形可能である。
【０２１３】
　さらに、本発明によれば、プロセス要件（例えば、同時に用いられるガラス転移温度又
はＭＦＩ又はメルトフロー粘度）が互いに異なるために通常は非両立性の材料を組み合わ
せることができる。これらの例としては、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）を含むポリカ
ーボネート（ＰＣ）の多層成形製品が挙げられる。
【０２１４】
　成形されるべき製品の成形の大部分は、液体ポリマーが表面上に当初流されたときの成
形面の表面凹凸又はパターンを取ることによって起こると考えられ、重力は、次の機械的
力が圧縮ステップによって上側成形面に加えられる前に液体ポリマーをモールド中に導入
するのを助ける。
【０２１５】
　本発明は、通常の押出しロールスタック加工下で明白な先行技術の他の問題、例えば「
ロールスタックチャター（roll-stack chatter）」を回避する。「チャター」は、圧力、
モータ駆動制御及び摩擦の影響に起因して成形中のロールスタックのローラ相互間の速度
差に起因して生じる。
【０２１６】
　冷却ゾーン―冷却／加熱―再熱及び再冷却（アニーリング）、ポリマーとダイ表面との
間の非常に僅かな温度差、非常に大きな温度差、ガラス転移温度未満になるまでの特定ゾ
ーン（例えば成形ゾーン及び第１の冷却ゾーン）における極めて穏やかな減少を変化させ
ることができる。
【０２１７】
　押出し物の頂面又は底面の温度を変化させることができるようにするためには、種々の
ポリマー又は種々のパターンに関する種々の温度が必要であり、これは又、ポリマーの一
様な又は非一様な「結晶化」を提供するよう利用可能である（特に、光学基板には又は一
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方の表面上におけるポリマー、例えば結晶ポリエチレンテレフタレート（ＣＰＥＴ）を架
橋するのに有用である）。
【０２１８】
　互いにくっつかない２種類のポリマーを互いに結合し、第１の層を貫通し、部分的に第
２の層中に穴を形成することが可能であり、この場合、ダイ表面（例えばピン形状物）が
いったんプロセス及びダイ表面から取り外され、２つの層を離層し（分離し）、後には、
穴が完全に貫通した１つの層が残される。これら材料の一例は、第１の層としての熱可塑
性ポリウレタン（ＴＰＵ）であり、第２の層としてのポリプロピレン（ＰＰ）であるのが
良い。
【０２１９】
　本発明を実施するための適当な無端ベルトシステム又は他の装置では、押出しダイ高さ
（Ｂ）及び角度（Ａ）を変化させることができる。
【０２２０】
　本発明の方法は、以下の形式のアイテム、即ち、例えば水、化学薬品、ガス、血液から
又はこれらの中の成分の分離のための分離膜又は燃料電池内での分離膜の使用、センサ装
置、光ディフューザ、光エミッタ、波反射又は吸収装置、例えばレーダ等、電子回路又は
電子回路部品、粒子アライメント又は位置合わせ技術、撥水材又は撥水技術、例えば疎水
性材料、光媒体、例えば液晶ディスプレイ（“ＬＣＤ”）又はコンパクトディスク（“Ｃ
Ｄ”）又はディジタルビデオディスク（“ＤＶＤ”）技術又は光電池、記憶装置、医療器
具、例えば皮膚修復又は創傷修復器具（例えば、包帯）、薬剤運搬機構体又は装置、減少
（低）摩擦性表面材料、増大（高）摩擦性表面材料、積層技術、無線認証（“ＲＦＩＤ”
）チップ、導電性ポリマー層／製品／回路、光曲げ技術、例えばネガティブ光反射のうち
の１つ又は２つ以上の成形を容易にすることができる。特に好ましいアイテムとしては、
光媒体、例えば光電池、コンパクトディスク（ＣＤ）、ディジタルビデオディスク（ＤＶ
Ｄ）、液晶ディスプレイ（“ＬＣＤ”）又は導電性回路又は回路部分の要素のための前駆
物質の成形が挙げられ、このようなアイテムは、後で行われる金属化及び成形材料の金属
のネガの画像が後に残るようにする成形物質の除去のための非反射性又は反射防止パター
ン又は膜を含む（例えば、次の金属化処理のためのベースとして成形製品を用いることが
できる）。
【０２２１】
　当業者には理解されるように、具体的には上述していない本発明に従って製造可能な他
のアイテムが存在する。
【０２２２】
　本発明の別の実施形態では、上述のアイテムは、成形されるべきプレスの一方の定盤上
に、互いに向かって押し付けられる少なくとも１つの他方の定盤と関連して布設され又は
塗布される材料前駆物質から形成可能であり、この場合、アイテムは、後で成形可能であ
る。本発明が全体的製造プロセスの一部をなし又は成形プロセスの中間部分をなす場合、
このようなアイテムを成形可能であり、又は、本発明により、アイテムを製造するための
材料又は前駆物質が提供される。当業者であれば理解されるように、本発明は、他の製造
プロセス又は手順の一部として利用可能である。
【０２２３】
実施例１
【０２２４】
　ポリスチレンを、
　（ｉ）加熱して２３０℃の温度に維持し、
　（ｉｉ）加熱したポリスチレンを移送して連続成形ツールの表面、例えば、ＰＣＴ／Ｎ
Ｚ２００６／０００３００の符号２６又は２４で示され、ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００
３０１の方法に従って成形された表面に塗布し、
　（ｉｉｉ）約１ｋｇ／ｃｍ2～約３ｋｇ／ｃｍ2の圧力を表面上の材料に加え、
　（ｉｖ）成形面を分離することにより圧力を除き、それによりこのようにして成形され
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【０２２５】
　このようにして形成された製品は、図１に示されているものであり、その製品分析結果
は、図２に示され、製品の一部の原子間力顕微鏡画像が図３に示されている。
【０２２６】
実施例２
【０２２７】
　ポリカーボネートを、
　（ｉ）加熱して３００℃の温度に維持し、
　（ｉｉ）加熱したポリスチレンを移送して連続成形ツールの表面、例えば、ＰＣＴ／Ｎ
Ｚ２００６／０００３００の符号２６又は２４で示され、ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００
３０１の方法に従って成形された表面に塗布し、
　（ｉｉｉ）約１ｋｇ／ｃｍ2～約３ｋｇ／ｃｍ2の圧力を表面上の材料に加え、
　（ｉｖ）成形面を分離することにより圧力を除き、それによりこのようにして成形され
たアイテム又は製品をリリースする。
【０２２８】
　このようにして成形された製品は、図４に示されたものであり、製品の分析結果が図５
に示されている。
【０２２９】
実施例３
【０２３０】
　ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を、
　（ｉ）加熱して１９０℃～２４０℃の温度に維持し、
　（ｉｉ）加熱状態のＰＭＭＡを押出しヘッドから押し出して移動ベルトフォーマ（ＭＢ
Ｆ）又は無端ベルト又は連続成形ツールの下側成形面（例えば、ＰＣＴ／ＮＺ２００６／
０００３００の符号２６又は２４で示され、ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００３０１の方法
に従って成形された表面）上に１ｍｍの深さ又は厚さをなして連続流の状態で流し、ＰＭ
ＭＡを成形面上に保持すると共にそのガラス転移温度（ＰＭＭＡのＴgは、約１０５℃で
ある）よりも高い温度状態に保持し又は可能にし、
　（ｉｉｉ）上側成形面を下側成形面上に保持されたＰＭＭＡの上面に当て、上側成形面
は、約１ｋｇ／ｃｍ2～約３ｋｇ／ｃｍ2の圧力をＰＭＭＡ材料に及ぼし、
　（ｉｖ）成形面（又は、下側及び上側成形面）を分離することにより圧力を除き、それ
によりこのようにして成形されたアイテム又は製品をリリースする。
【０２３１】
　以下の表は、この実施例の加工パラメータの別の細部を提供している。理解されるべき
こととして、この実施例は、本発明に従って成形されるべき広汎な材料に利用できる。異
なる物理的性質を備えた別の材料を用いることとは別に、加工されるべき材料に応じて他
の加工パラメータを変更することができる。
【０２３２】
　　　　　　　　　　　　　表１‐ＰＭＭＡ加工パラメータ
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【０２３３】
　　　　　　　　　　　表２‐プロセス中のＰＭＭＡ温度変化

【０２３４】
　図６を参照すると、上述の表２は、ＰＭＭＡ材料が本発明に従って加工されているとき
の加工中のＰＭＭＡ材料の近似的温度プロフィールの細部を提供している。温度ゾーンＴ
Ｚ‐１，ＴＺ‐２，ＴＺ‐３，ＴＺ‐４，ＴＺ‐５，ＴＺ‐６，ＴＺ‐７は、図６に示さ
れたプロセスの種々のゾーンに対応している。図６は、材料が本発明のプロセスを通過し
ているときの材料の温度プロフィールのグラフ図である。
【０２３５】
実施例４
【０２３６】
　ポリスチレン（ＰＳ）を、
　（ｉ）加熱して約２３０℃の温度に維持し、
　（ｉｉ）加熱状態のＰＳを押出しヘッドから押し出して移動ベルトフォーマ（ＭＢＦ）
又は無端ベルト又は連続成形ツールの下側成形面（例えば、ＰＣＴ／ＮＺ２００６／００
０３００の符号２６又は２４で示され、ＰＣＴ／ＮＺ２００６／０００３０１の方法に従
って成形された表面）上に１ｍｍの深さ又は厚さをなして連続流の状態で流し、ＰＳを成
形面上に保持すると共にそのガラス転移温度（Ｔgは、約１００℃である）よりも高い温
度状態に保持し又は可能にし、
　（ｉｉｉ）上側成形面を下側成形面上に保持されたＰＳの上面に当て、上側成形面は、
約１ｋｇ／ｃｍ2～約３ｋｇ／ｃｍ2の圧力をＰＳ材料に及ぼし、
　（ｉｖ）成形面（又は、下側及び上側成形面）を分離することにより圧力を除き、それ
によりこのようにして成形されたアイテム又は製品をリリースする。
【０２３７】
　　　　　　　　　　　　　　表３‐ＰＳ加工パラメータ
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【０２３８】
　　　　　　　　　　　　表４‐プロセス中のＰＳ温度変化

【０２３９】
　本発明の上記説明は、本発明の好ましい形態に関する。本発明の範囲から逸脱すること
なく、このような形態の改造例を想到できる。

【図１】 【図２】
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